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Abstract 



A method for manufacturing a thin film magnetic head slider having a media opposing surface which is adapted to be opposed to a recording 
medium, includes the steps of forming on a sacrificial layer, on a substrate, in such a manner that the sacrificial layer has a surface 
including steps for forming the media opposing surface having at least one rail, providing a slider material on the surface of the sacrificial 
layer, and removing the sacrificial layer and the substrate from the slider. A tracking mechanism or loading/unloading mechanism can be 
provided on the slider. An electrostatic actuator suitable for driving such a mechanism includes a stationary section having a plurality of 
teeth parallel to each other, a movable section having a plurality of teeth parallel to the teeth of the stationary section, a support spring for 
supporting the movable section so that the movable section can be moved with respect to the stationary section in the tooth width 
direction. A drive force generator moves the movable section to a position at which an electrostatic attraction force in the tooth width 
direction generated when a voltage is impressed between the teeth of the stationary section and those of the movable section, is balanced 
with the elastic force of the head suspension. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

<f£) Dunnfilm-Magnetkopfgleiter und elektrostatischer Stellantrieb fur den Antrieb eines Kopfelementes 
desselben 

© Ein Verfahren zum Herstallen eines Dunnfitm-Magnetkopf- 

g loiters mit einer Mediumgegenfliiche, welche dazu ausge- 

legt ist, einem Aufnahmemedium gegenuberliegend ange- 

ordnot zu werden, umfaSt die Schritte der Bildung einer 

Opferschicht auf einem Substrat in einer solchen Weise, 

daB die Opferschicht eine Oberftache hat einschlieBHch 

Schrttten zum Bilden der Mediumgegenflache mit wenig- 

stens einer Schtene, ferner Schaffung eines Glertermaterials 

auf der Oberfftche der Opferschicht, und Entfernen der 

Opferschicht und des Substrates vom Gieiter. En Spurme- 

chanismus oder Lade-/Entlademechanismus kann am Gieiter 

vorgesehen sein. Ein elektrostatischer Stellantrieb, welcher 

fur den Antrieb eines solchen Mechanismus geetgnet ist. 

umfa&t einen stationaren Abschnitt mrt einer Vfelzahl von 
^ zueinander para 1 1 el en Zahnen, ferner einen beweglichen 

Abschnitt mit einer Vielzahl von zu den Zihnen des stationa- 
0) ren Abschnittes parallelen Zahnen, eine Haltefeder zum 
1*^ Hatten des beweglichen Abschnines derart, daft der beweg- 
W Hche Abschnitt gegenuber dem stationaren Abschnitt in der 
^ Zahnbreitenrichtung bewegt werden kann. Ein Antriebskraft- 
^3 erzeuger bewegt den beweglichen Abschnitt in eine Post- 

tion, bei der eine elektrostatische Anziehungskraft in der 
0> Zahnbreitenrichtung, die erzeugt wird, wenn eine Spannung 
^™ zwischen den Zahnen des stationaren Abschnittes und 

denen des beweglichen Abschnittes aufgepragt wird, durch 
IU die elastische Kraft der Kopfaufhangung ausgeglichen wird. 

o 



Die folgenden Angaben slnd den vom Anmelder olngeceichten Unterlagen entnommen 

BUNDESDRUCKEREI 07.36 602 036/422 



47/25 



1 

Beschreibung 



DE 196 07 379 Al 



Hintergrund der Erfindung 

1. Technisches Gebiet der Erfindung 

Die vorliegende Erfindung betrifft einen fur eine Ma- 
gnetplatteneinheit verwendeten Dunnfilm-Magnet- 
kopfgleiter, ein Herstellungsverfahren fur diesen und 
einen eiektrostatischen Stellantrieb fur den Antrieb ei- 
nes Kopfelementes desselben. 

2. Beschreibung des reievanten Standes der Technik 

In den vergangenen Jahren wurde die Magnetplatten- 
einheit kompakter gemacht, ihre Leistung wurde erheb- 
lich verbessert und ihre Kosten wurden reduziert Ent- 
sprechend der jungsten Tendenz ist es erwunscht, einen 
Dunnfilm-Magnetkopf hoher Leistung und niedriger 
Kosten zu entwickeln. Urn diese Forderung zu erf alien, 
wird ein Horizontalmagnetkopf (Planarmagnetkopf) 
vorgeschlagen, bei welchem eine Dunnfilmmusterflache 
parallel zu einer Luftlagerflache angeordnet ist. Der 
Grund wird nachfolgend beschrieben. Im Falle eines 
Horizontalmagnetkopf es ist es einfach, Schwebeschie- 
nen mit spezifischen Gestaltungen zu bilden. Es ist des- 
halb moglich, einen Magnetkopf zu schaffen, welcher in 
der Lage ist, nahe tiber der Plattenoberflache stabii zu 
fliegen, und auSerdem ist es einfach, den mit Maschinen 
zu bearbeitenden Anteil beim HerstellungsprozeB zu 
reduzieren, so daB die Kosten abgesenkt werden kon- 
nen. 

Beispiele der herkfimmlichen Horizontalmagnetkopf- 
gleiter sind in den folgenden Veroffendichungen daree- 
stellt 

IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, voL 25, 
p. 3190, 1989, "A New Thin Film Head Generation" by 
JP. Lazzari und P. Deroux-Dauphin. Bei diesem her- 
kommlichen Beispiel ist auf der Oberflache eines Sili- 
ziumsubstrates mittels eines Atzvorganges eine Aus- 
nehmung gebildet, und in der Ausnehmung ist ein Ma- 
gnetkopf element gebildet In diesem Fall wird die Sili- 
ziumsubstratoberflache als einem Aufnahmemedium 
gegenuberiiegende Lufdagerflache verwendet. Der An- 
schluB des Magnetkopfes ist deshalb auf die Ruckseite 
des Gleiters gefiihrt. Dementsprechend ist eine das Sili- 
ziumsubstrat durchdringende Durchgangsoffnung so 
ausgebildet, daB sie sich von dem AnschluB aus er- 
streckt In diesem Beispiel ist der Gleiterkorper durch 
Maschinenbearbeitung hergestellt. 

IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, voL 25, 
p. 3686, 1989, "A New Approach to Making Thin Film 
Head-Slider Devices" by Daniel W. Chapman. Bei die- 
sem herkammlichen Beispiel ist ein Dunnfilm-Magnet- 
kopfelement auf dem Substrat an der Lufdagerflachen- 
seite ausgebildet und ein Isolierfilm ist flach ausgefuhrt; 
sodann wird ein Glassubstrat, durch welches eine 
Durchgangsoffnung hindurchgefahrt ist, einer Klebung 
unterworfen. Auf diese Weise wird der Gleiterkorper 
hergestellt Danach wird das Substrat fur den Abtrag 
geatzt und der Gleiterkorper wird durch maschinelle 
Bearbeitung ausgeschnittea 

Bei den oben beschriebenen herkommlichen Beispie- 
len ist es notwendig, Hersteilungsprozesse vorzusehen, 
bei denen der Gleiterkdrper maschinell bearbeitet wird, 
ferner an den Gleiter individuell eine Kopfaufhangung 
anzubauen, eine das Substrat durchdringende Durch- 



gangsoffnung aus zubilden, einen Leiter in der Durch- 
gangsoffnung einzubetten und ein Glassubstrat zu kle- 
ben. Demzufolge wird der HerstellungsprozeB kompli- 
ziert. 

5 

Zusammenfassung der Erfindung 

Die erste Aufgabe der voriiegenden Erfindung ist es, 
einen Dunnfilm-Magnetkopfgleiter hoher Leistung und 
io niedriger Kosten zu schaffen, und ferner ein Verfahren 
fur eine einfache Herstellung des Dunnfilm-Magnet- 
kopfgleiters ohne Bildung einer Durchgangsoffnung 
oder Kleben eines Glassubstrates zur Verfugung zu 
stellen. 

is Die zweite Aufgabe der voriiegenden Erfindung ist, 
einen Dunnfilm-Magnetkopfgleiter zu schaffen, welcher 
einfach und ohne Bildung einer Durchgangsoffnung so- 
wie Kleben eines Glassubstrates herstellbar ist, und bei 
welchem das Magnetkopfelement hochgenau so posi- 
20 tioniert werden kann, daB eine auBerst dichte Aufnahme 
verwirklicht und die Zuverlassigkeit erhoht werden 
kann, indem ein Spurmechanismus fur das Dunnfilm- 
Magnetkopfelement hinzugefugt wird (der Spurmecha- 
nismus bewegt das Magnetkopfelement in winzigen 
25 Schritten in einer annahernd senkrecht zur Bewegungs- 
richtung des Aufnahmemediums stehenden Spurrich- 
tung) oder indem ein Bewegungsmechanismus fur klei- 
ne Abstandsschritte hinzugefUgt wird, der in der Lage 
ist, den Magnetkopf in kleinen Schritten in der Richtung 
30 des Absenkens und Abhebens gegenuber einem Auf- 
nahmemedium hin zu bewegen, so daB der Magnetkopf 
dem Aufnahmemedium angenahert oder von diesem 
entfernt werden kann. 

Die dritte Aufgabe der voriiegenden Erfindung ist, 
35 einen eiektrostatischen Stellantrieb zu schaffen, welcher 
fur einen Antriebsmechanismus geeignet ist, der fur den 
Spurmechanismus oder den Lade- und Entlademecha- 
nismus (Absenk- und Abhebemechanismus) bei dem 
obengenannten Dunnfilm- Magnetkopfelement ver- 
40 wendbarist. 

GemaB einem Aspekt der voriiegenden Erfindung ist 
ein Verfahren zum Herstellen eines Dunnfilm-Magnet- 
kopfgleiters mit einer Medium-Gegenflache zu schaf- 
fen, die fur eine einem Aufnahmemedium gegenilberlie- 
45 gende Anordnung ausgelegt ist, wobei dieses Verfahren 
folgende Schritte umfaBt: Anordnen eines Gleitermate- 
rials auf einer Oberflache eines Substrates, oder auf 
einer Oberflache einer Opferschicht auf dem Substrat, 
wobei diese Oberflache des Substrates oder diese Ober- 
50 flache der Opferschicht zuvor in einer bestimmten Ge- 
stahung gebildet wird, urn diese Medium-Gegenflache 
auszubilden; Ausbilden des Gleiters auf der Oberflache 
des Substrates oder auf der Oberflache der Opfer- 
schicht; und Entfernen des Substrates oder der Opfer- 
55 schicht und des Substrates von dem Gleiter. 

GemaB einem anderen" Aspekt der voriiegenden Er- 
findung ist ein Dunnfilm-Magnetkopfgleiter vorgese- 
hen, welcher fur eine einem Aufnahmemedium gegen- 
uberiiegende Anordnung ausgelegt ist und welcher um- 
60 faBt: Einen auf einer Oberflache eines Substrates oder 
auf einer Oberflache einer auf einem Substrat vorgese- 
henen Opferschicht angeordneten Gleiterkorper, wobei 
das Substrat oder die Opferschicht mit dem Substrat 
vom Gleiterkorper getrennt sind; einen Spurmechanis- 
65 mus, welcher von einem stationai*en Abschnitt des 
Gleiterkflrpers so gehalten wird, daB ein beweglicher 
Abschnitt, welcher ein Teil des Gleiterkorpers ist, in 
einer Spurrichtung annahernd senkrecht zu einer Bewe- 
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gungsrichtung des Aufnahmemediums bewegt werden 
kann; und wenigstens einen magnetischen Gegenpol ei- 
nes DOnnfllm-Magnetkopfelementes, welcher fOr eine 
dem Aufnahmemedium gegenuberliegende Anordnung 
ausgelegt und in einem beweglichen Abschnitt des 
Spurmechanismus angeordnet ist 

GemaB einem anderen Aspekt der vorliegenden Er- 
findung ist ein Dunnfilm-Magnetkopfgleiter vorgese- 
hen, welcher fur eine einem Aufnahmemedium gegen- 
iiberliegende Anordnung ausgelegt ist und umfaBt: Ei- 
nen Gleiterkorper, welcher auf einer Oberflache eines 
Substrates oder auf einer Oberflache einer auf einem 
Substrat angeordneten Opferschicht angeordnet ist, 
wobei das Substrat oder die Opferschicht mit dem Sub- 
strat vom Gleiterfilmkorper getrennt sind; einen Lade- 
und Entlademechanismus, welcher von einem stationa- 
ren Abschnitt des Gleiterkdrpers so gehalten wird, daB 
ein beweglicher Abschnitt, der ein Teil des. Gleiterkdr- 
pers ist. in einer Lade- und Entladerichtung bewegt wer- 
den kann, bei der der bewegliche Abschnitt des Gleiter- 
kdrpers sich dem Aufnahmemedium nahert bzw. von 
diesem entfernt wird; und wenigstens einen magne- 
tischen Gegenpol eines Dilnnfilm-Magnetkopfelemen- 
tes, welcher fur eine dem Aufnahmemedium gegenuber- 
liegende Anordnung ausgelegt und in einem bewegli- 
chen Abschnitt des Lade- und Entlademechanismus vor- 
gesehen isL 

GemaB einem vierten Aspekt der vorliegenden Erfin- 
dung ist ein Dunnfilm-Magnetkopfgleiter vorgesehen, 
welcher fur eine einem Aufnahmemedium gegenuber- 
liegende Anordnung ausgelegt ist und umfaBt: Einen auf 
einer Oberflache eines Substrates oder auf einer Ober- 
flache einer auf einem Substrat vorgesehenen Opfer- 
schicht angeordneten Gleiterkorper, wobei das Substrat 
oder die Opferschicht mit dem Substrat vom Gleiter- 
korper getrennt sind; wobei der Gleiterkorper einen 
stationaren Abschnitt sowie einen beweglichen Ab- 
schnitt umfaBt, welcher von dem stationaren Abschnitt 
uber eine Haltefeder so gehalten wird, dafi der bewegli- 
che Abschnitt sowohl in einer Spurrichtung annahernd 
senkrecht zu einer Bewegungsrichtung des Aufnahme- 
mediums als auch in einer Lade- und Entladerichtung 
(Absenk- und Abhebemechanismus) bewegt werden 
kann, bei der der bewegliche Abschnitt des Gleiterfilm- 
korpers sich einem Aufnahmemedium nahert bzw. von 
diesem trennt; und wenigstens einen magnetischen Ge- 
genpol eines Dunnfilm-Magnetkopfelementes, welcher 
fur eine dem Aufnahmemedium gegenuberliegende An- 
ordnung ausgelegt und in einem beweglichen Abschnitt 
des Spurmechanismus angeordnet ist 

GemaB einem filnf ten Aspekt der vorliegenden Erfin- 
dung ist ein elektrostatischer Stellantrieb vorgesehen, 
welcher umfaBt: Einen stationaren Abschnitt mit einer 
Vielzahl zueinander paralleler Zahne; einen bewegli- 
chen Abschnitt mit einer Vielzahl -von zu den Zahnen 
des stationaren Abschnittes parallelen Zahnen; eine 
Haltefeder zum Halten des beweglichen Abschnittes 
derart, daB der bewegliche Abschnitt gegenQber dem 
stationaren Abschnitt in einer Zahnbreitenrichtung be- 
wegt werden kann; und einen Antriebskrafterzeugungs- 
abschnitt zum Bewegen des beweglichen Abschnittes in 
eine Position, bei der eine elektrostatische Anziehungs- 
kraft in der Zahnbreitenrichtung, die dann erzeugt wird, 
wenn eine Spannung zwischen den Zahnen des stationa- 
ren Abschnittes und denen des beweglichen Abschnittes 
aufgepragt wird, durch eine Rucks tellkraft der Haltefe- 
der ausgeglichen wird 



fCurze Beschreibung der Zeichnungen 



Fig. 1(a) bis 1(c) sind Ansichten, welche die erste Aus- 
fuhrung des Dunnfilm-Magnetkopfgleiters der vorlie- 
5 genden Erfindung zeigen, wobei Fig. 1(a) eine perspek- 
tivische Ansicht des Gleiters ist, gesehen von dessen 
Ruckseite, bevor der Gleiter an einer Kopfaufhangung 
befestigt wird, und Fig. 1(b) eine perspektivische An- 
sicht des Gleiters ist, gesehen von der Luftlagerfiachen- 
io seite desselben her, nachdem der Gleiter an der Kopf- 
aufhangung befestigt worden ist, und Fig. 1(c) eine 
Querschnittansicht entlang der Linie A- A' ist; 

Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht einer Abwand- 
iung des Dunnfilm-Magnetkopfgleiters der ersten Aus- 
15 fuhrung; 

Fig. 3 ist eine schematische Darsteilung, die ein Ver- 
fahren zum Verbinden der FCopfaufhangung mit dem 
Gleiter zeigt; 

Fig. 4 ist eine schematische Darsteilung, die ein Ver- 
20 fahren zum Verbinden der Kopfaufhangung mit dem 
Gleiter zeigt; 

Fig. 5(a) bis 5(e) sind schematische Darstellungen, die 
den HerstellungsprozeB des Dunnfilm-Magnetkopfglei- 
ters der vorliegenden Erfindung zeigen; 
25 Fig. 6(a) und 6(b) sind schematische Darstellungen, 
die einen Dunnfilm-Magnetkopfgleiter der vorliegen- 
den Erfindung in der Mitte des Herstellungsprozesses 
zeigen; 

Fig. 7(a) bis 7(c) sind Ansichten, die ein Verfahren 
30 zum gleichzeitigen Verbinden einer Vielzahl von Kopf- 
aufhangungen mit einer Vielzahl von Gleitern zeigen; 

Fig. 8(a) bis 8(d) sind Ansichten, die ein Beispiel des 
Verfahrens zum Bilden eines abgeschragten Abschnit- 
tes der Luftlagerschiene zeigen; 
35 Fig. 9(a) und 9(b) sind Ansichten, welche ein anderes 
Beispiel des Verfahrens zum Bilden eines abgeschragten 
Abschnittes der Luftlagerschiene zeigen; 

Fig. 10(a), 10(b) und 10(c) sind Ansichten, welche eine 
zweite Ausfuhrung des Dunnfilm-Magnetkopfgleiters 
40 der vorliegenden Erfindung zeigen, wobei Fig. 10(a) ei- 
ne perspektivische Ansicht des Dunnfilm-Magnetkopf- 
gleiters, von der Luftlagerflachenseite her gesehen, ist, 
Fig. 10(b) eine perspektivische Ansicht des Dunnfilm- 
Magnetkopfgleiters von der Ruckseite her gesehen, ist 
45 und Fig. 10(c) eine Querschnittansicht entiang der Linie 
B-B' ist, die einen Spurantriebsmechanismus fur den An- 
trieb des Magnetkopfelementes zeigt; 

Fig. 11(a) und 11(b) sind perspektivische Ansichten, 
welche Abwandlungen des in Fig. 10(c) gezeigten Spur- 
50 antriebsmechanismus zeigen; 

Fig. 12(a) und 12(b) sind Ansichten, welche eine dritte 
Ausfuhrung des Dunnfilm-Magnetkopfgleiters der vor- 
liegenden Erfindung zeigen, wobei Fig. 12(a) eine per- 
spektivische Ansicht des Dunnfilm-Magnetkopfgleiters 
55 von der Luftlagerflachenseite her gesehen ist, und 
Fig. 12(b) eine perspektivische Ansicht des Dunnfilm- 
Magnetkopfgleiters von der Ruckseite her gesehen ist; 

Fig. 13(a) und 13(b) sind Querschnitt- bzw. Langs- 
schnittansichten des Lade- und Entladeantriebsmecha- 
60 nismus entsprechend der Fig. 10(c); 

Fig. 14(a) ist eine schematische Darsteilung, welche 
das Prinzip des elektrostatischen Stellantriebes gemaB 
dem Stand der Technik zeigt, und Fig. 14(b) ist eine 
schematische Darsteilung, welche das Prinzip des elek- 
65 trostatischen Stellantriebes gemaB der vorliegenden Er- 
findung zeigt; 

Fig. 15 ist ein Diagramm, welches die Relation zwi- 
schen der Kraft und dem Wert g2/gi des elektrostati- 
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schen Stellantriebes der vorliegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 16 ist eine Draufsicht welche eine Ausfuhrung 
des elektrostatischen Stellantriebes der vorliegenden 
Erfindung zeigt; 

Fig. 17(a) bis 17(e) und Fig. 18(a) bis 18(e) sind sche- 
matische Darstellungen zum Erlautern des Herstel- 
lungsprozesses des elektrostatischen Stellantriebes der 
vorliegenden Erfindung, wobei die schematischen Dar- 
stellungen in der Reihenfolge des Herstellungsprozes- 
ses angeordnet sind; 

Fig. 19 ist eine Draufsicht, welche eine andere Aus- 
fQhrung des elektrostatischen Stellantriebes der vorlie- 
genden Erfindung zeigt; 

Fig. 20(a) bis 20(c) sind Diagramme, welche Beispiele 
fur an den elektrostatischen Stellantrieb der in Fig. 19 
gezeigten Ausfuhrung angelegte Spannungen zeigen; 

Fig. 21 ist eine perspektivische Ansicht des Kopfglei- 
ters, in welchen der elektrostatische Stellantrieb einge- 
baut ist; 

Fig. 22 ist eine Querschnittsansicht des Kopfgleiters, 
in welchen der elektrostatische Stellantrieb eingebaut 
worden ist; 

Fig. 23 ist eine perspektivische Ansicht des Kopfglei- 
ters, in welchen ein elektrostatischer Stellantrieb einge- 
baut worden ist, der in der Lage ist, auBerst kleine Be- 
wegungen in der Spumchtung sowie in der Lade- und 
EntJaderichtung auszufilhren; 

Fig. 24 ist eine Teilschnittansicht des Antriebsab- 
schnittes fur den Stellantrieb des in Fig. 23 gezeigten 
Kopfgleiters; 

Fig. 25 und 26 sind Ansichten des Kopfgleiters in der 
Richtung des Pfeiles A in Fig. 23; 

Fig. 27(a) bis 27(d) sind Ansichten, welche eine Aus- 
fuhrung des ICopfgleiters zeigen, in dessen Antriebsab- 
schnitt piezoelektrisches Material verwendet wird, wo- 
bei Fig. 27(a) eine perspektivische Ansicht des Kopfglei- 
ters von der Luftlagerflachenseite her gesehen ist; 
Fig. 27(b) ist eine perspektivische Ansicht des Kopfglei- 
ters von der Ruckseite her gesehen, Fig. 27(c) ist eine 
vergroBerte Querschnittsansicht entlang einer Linie 
A-A, und Fig. 27(d) ist eine vergrSBerte Ansicht des 
Antriebsabschnittes ; 

Fig. 28 ist eine Ansicht, welche eine andere, der 
Fig. 27(d) entsprechende Ausfuhrung des Antriebsab- 
schnittes zeigt, bei welchem piezoelektrisches Material 
verwendet wird; 

Fig, 29 ist eine Ansicht, die noch eine andere, der 
Fig. 27(d) entsprechende AusfQhrung des Antriebsab- 
schnittes zeigt, bei welchem piezoelektrisches Material 
verwendet wird; 

Fig. 30(a) und 30(b) sind Ansichten zum Erlautern der 
Bewegung des Kopfgleiters fur den Fall des Antriebes, 
wobei der Antriebsabschnitt piezoelektrisches Material 
verwendet, wobei Fig. 30(a) eine Oberseitenansicht und 
Fig. 30(b) eine Querschnittsansicht des Auslegers zeigt; 
und 

Fig. 31(a) und 31(b) sind Ansichten zum Erlautern der 
Bewegung des Kopfgleiters, wenn der Antriebsab- 
schnitt in der Lade- und Entladerichtung angetrieben 
wird unter Verwendung von piezoelektrischem Materi- 
al, wobei Fig. 31(a) eine Querschnittsansicht in der Rich- 
tung der Auslegerseite und Fig. 31(b) eine Querschnitts- 
ansicht des Auslegers sind. 

Genaue Beschreibung der bevorzugten Ausftthrungen 

Die Fig. 1(a) bis 1(c) sind Ansichten, welche die erste 
Ausfuhrung des Dtinnfilm-Magnetgleiters der vorlie- 



genden Erfindung zeigen. Fig. 1(a) ist eine perspektivi- 
sche Ansicht des Gleiters 20, bevor dieser mit einer 
Kopfaufhangung 30 zusammengebaut worden ist, wo- 
bei dieses eine Ansicht von der RQckseite her ist, d. h. 
5 yon der der Lufdagerseite abgewandten Seite. Fig. 1(b) 
ist eine perspektivische Ansicht des Gleiters 20, weicher 
an der Kopfaufhangung 30 befestigt ist, wobei es sich 
urn eine Ansicht von der Luftlagerseite her handelt 
Fig. 1(c) ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie 
io A-A'inFig. 1(a). 

Der Gleiter 20 umfaBt eine aus Si0 2 oder A1 2 0 3 her- 
gesteilte Lufdagerflache 21 und einen aus einem Leiter- 
material wie etwa Ni hergestellten Gleiterkorper 22, 
wobei der Gleiterkorper 22 auf der Ruckseite der Luft- 
15 lagerflache 21 angeordnet ist Der Gleiterkdrper 22 ist 
aus einer Vielzahl von ira Zentrum angeordneten An- 
schluBpads 23 und einem auBeren Peripheriebereich 24 
gebildet Die Vielzahl von AnschluBpads 23 ist in der 
Richtung parallel zur Lufdagerflache angeordnet Ein 
20 vorgegebener Zwischenraum 25 ist zwischen den Pads 

23 und auch zwischen jedem Pad 23 und der aufleren 
Peripherie 24 gebildet Es sind 2 Satze von Anschlussen 
vorgesehen, d. h. es gibt .4 AnschlOsse. Es sind auch 2 
Satze von AnschluBpads 23 vorgesehen, dh.es gibt 4 

25 AnschluBpads 23. In diesem Fall wird ein Satz Anschlus- 
se (MR-Elemente) als Lesekopfelemente und der andere 
Satz Anschlusse (Indukuvkopfelement) als Schreibkopf- 
elemente verwendet Es ist mdgiich, einen Satz An- 
schlGsse, beispielsweise 2 Anschlusse zu verwenden, 
30 wenn ein Element sowohl als Lese- wie auch als 
Schreibkopfelement eingesetzt wird. In den Zwischen- 
raumen 25 ist ein Harz 26, wie etwa Polyimid in einer 
solchen Weise vorgesehen, daB die Ruckseite der Luft- 
lagerflache 21 mit dem Harz uberdeckt ist In diesem 
35 Zusammenhang sei erwahnt, daB die auBere Peripherie 

24 des Gleiterkorpers 22 als eines der Anschluflpads 
verwendet werden kann. 

Wie in Fig. 1(a) gezeigt ist, ist die Ruckseite des Glei- 
ters 20 an der Kopfaufhangung 30 befestigt Wie in 
40 Fig. 1(b) gezeigt ist, sind auf der Luftlagerflache 21 des 
Gleiters 20 zwei Seitenschienen 27 vorgesehen, die an- 
nahernd parallel zu der Piatt endrehrichtung B sind, fer- 
ner eine Mittelschiene 28, die in der Mitte an der Vor- 
laufseite angeordnet ist und ein Dflnnfilmkopf 29. An 
45 den Vorlaufenden der Seitenschienen 27 und der Mittel- 
schiene 28 sind abgeschragte Abschnitte 27a bzw. 28a 
ausgebildet 

Der Gleiter 20 hat eine im wesentlichen rechteckige 
Form, wenn man inn von der Seite der Medium-Gegen- 
50 flache oder der Luftlagerflache her sieht und die im 
wesentlichen rechteckige Form hat entsprechende Ek- 
ken, die jeweils abgefast oder abgerundet sind. Die Lan- 
ge des Gleiters 20 entlang einer Bewegungsrichtung des 
Aufnahmemediums ist etwa 0,8 mm oder unter 0,8 mm. 
55 In Fig. 2 ist eine Abwandlung des Dunnfilm-Magnet- 
kopf gleiters gezeigt In der in den Fig. 1(a) bis 1(c) ge- 
zeigten Ausfuhrung umgibt das Leitermaterial der au- 
Beren Peripherie 24 des Gleiterkorpers 22 die Pads 23. 
In der vorliegenden Abwandlung ist andererseits ein 
6o Rahmen des Hauptkorpers 22 des Gleiters 20 aus einem 
Leitermaterial gebildet und AnschluBpads 23 sind au- 
fierhalb des Rahmens angeordnet Wie oben beschrie- 
ben wurde, ist es radglich, die AnschluBpads 23 in will- 
kilrlichen Positionen im Gleiter 20 anzuordnen. In 
65 Obereinstimmung mit den Formen der Schwebeschie- 
nen 27, 28 (in Fig. 1(b) gezeigt) ist es moglich, die Form 
des Gleiterkorpers 22 willkiirlich so zu andern, daB die 
Steifigkeit aufrechterhalten werden kann. 
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Fig. 3 ist eine Ansicht, die eine Verbindung zwischen 
dem Gleiter 20 und der Kopfaufhangung 30 zeigt Bei 
dieser Ausfuhrung ist ein KJebemetall 31 auf der Rfick- 
seite der Anschlufipads 23 und der auBeren Peripherie 
24 des Hauptkorpers des Gleiters 20 vorgesehen. Mit- 
tels Thermokompressionsklebung, Ultraschall-Kom- 
pressionsklebung (C) oder Klebung mittels Ieitfahigen 
Klebers werden die Pads 23 und die auBere Peripherie 
24 des Hauptkfirpers einer Verklebung mit der Kopf- 
aufhangung 30 unterworfen, auf welcher ein Ieitfahiger 
AnschluBbbereich 32 ausgebildet ist In diesem Fall sind 
die Anschlufipads 23 elektrisch und mechanisch mit der 
Kopfaufhangung 30 verbunden, und die auBere Periphe- 
rie 24 des Gleiterkorpers ist mechanisch mit der Kopf- 
aufhangung 30 verbunden. Wenn die auBere Peripherie 
24 des Gleiterkorpers auch als eines der AnschluBpads 
verwendet wird, sind aile Verbindungsabschnitte elek- 
trisch und mechanisch verbunden. 

Fig. 4 ist eine Ansicht, die eine andere Ausfuhrung der 
Verbindungsmethode zum Verbinden des Gleiters 20 
mit der Kopfaufhangung 30 zeigt In dieser Ausfuhrung 
sind der Gleiter 20 und die Kopfaufhangung 30 einer 
Adchesions- oder Kompressionsklebung unterworfen, 
und das AnschluBpad 23 ist mit dem auf der Ruckseite 
der Kopfaufhangung 30 angeordneten Ieitfahigen Ab- 
schnitt 33 uber einen Draht 34 mittels Kleben oder Lo- 
ten verbunden. Alternativ dazu kann ein entlang der 
Kopfaufhangung 30 angeordneter Leiterdraht (in der 
Zeichnung nicht gezeigt) direkt mit dem AnschluBpad 
23 verbunden sein. 

Fig. 5(a) bis 5(e) sind Ansichten, die den Herstellungs- 
prozeB des Gleiters 20 zeigen. Diese Ansichten entspre- 
chen Querschnittsansichten endang der Linie A-A' in 
Fig. 1(a). 

Zuerst werden auf der Oberflache des Si-Substrates 
46 Formen der Luftlagerschienen (sowohl Seitenschie- 
nen als auch Mittelschiene) aus dem Material einer Op- 
ferschicht, wie etwa Al, Ti und Ta gebildet (in Fig. 5(a) 
gezeigt). 

Fig. 6(a) ist eine perspektivische Ansicht, die der 
Fig. 5(a) entspricht Wie in der Zeichnung gezeigt ist, 
sind Bereiche des Si-Substrates 46 mit Ausnahme der 
Bereiche, in denen die Luftlagerschienen spater geformt 
werden, mit der aus Al hergestellten Opferschicht be- 
schichtet In diesem Zusammenhang sei bemerkt, dafl 
ein Verfahren zum Formen eines abgeschragten Berei- 
ches der Schwebeschienen spater beschrieben wird. Als 
nachstes wird eine Opferschicht (Al) auf der gesamten 
oberen Oberflache gebildet (in Fig. 5(b) gezeigt). Als 
nachstes wird ein Aufnahme- und Wiedergabekopfele- 
ment gebildet, und es wird ein Film aus SiO* diamantar- 
tiger Kohle (Karbon) oder A1 2 0 3 auf der Luftlagerflache 
ausgebildet (in Fig. 5(c) gezeigt). In diesem Zusammen- 
hang sei erwahnt daB nachdem das Aufnahme- und 
Wiedergabekopfelement gebildet worden ist und bevor 
der Film auf der Schwebeflache ausgebildet worden ist, 
das Kopfelement 41 mit dem das AnschluBpad bilden- 
den Bereich 42 durch einen Leiterdraht 43 verbunden 
wird, wie in Fig. 6(b) gezeigt ist Als nachstes wird ein 
(nicht gezeigter) Ieitfahiger Film zum Plattieren gebil- 
det, und es wird eine zum Plattieren verwendete (nicht 
gezeigte) Maske aus Fotoresisdack gebildet Danach 
werden das AnschluBpad 23 und oder Gleiterkdrper 22 
durch Plattieren eines Metalls wie etwa Ni, NiFe, Au 
oder Cu gebildet Nach der Beendigung des Plattiervor- 
ganges wird der leitfahige Film in einem Bereich, wo 
kein Fotoresisdack ist, und ebenso ein Ieitfahiger Film in 
einem Bereich, wo kein Plattierfilm ist, entfernt (in 
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Fig* 5(d) gezeigt). Ein Film eines Klebemetalls 45, wie 
etwa Au, wird auf dem AnschluBpad 23 und auf der 
Ruckseite des Gleiterkorpers 22 gebildet, und sodann 
wird ein Harz 26, wie etwa Polyimid, zwischen den An- 
5 schluBpads 23 und dem Gleiterkorper 22 vorgesehen (in 
Fig. 5(e) gezeigt). In diesem Zusammenhang sei er- 
wahnt, daB ein anorganisches Material wie etwa dia- 
mantartige Kohle oder Si0 2 zwischen dem AnschluB- 
pad 23 und dem Gleiterkorper 22 vorgesehen werden 
io kann. Danach wird der Gleiter 20 mit der Kopfaufhan- 
gung 30 mittels Kleben verbunden, und die Opferschicht 
oder sowohl die Opferschicht als auch das Substrat wer- 
den geatzt so daB der Gleiter 20 von dem aus Si herge- 
stellten Substrat 46 getrennt wird. In diesem Zusam- 
15 menhang sei erwahnt, daB der Gleiter 20 naturlich mit 
der Kopfaufhangung 30 verbunden werden kann, nach- 
dem der Gleiter 20 von dem Substrat 46 getrennt wurde. 

Fig. 7(a) bis 7(c) sind Ansichten, welche ein Verfahren 
fur den Zusammenbau des Gleiters 20 der vorliegenden 
20 Erfindung und der Kopfaufhangung 30 zeigen. Nach- 
dem Gleiter 20 auf einem Substrat 46 gebildet worden 
sind, wird dieses Substrat 46 zu einem Block 47 geschnit- 
ten, welcher eine Vielzahl von Gleitern 20 umfaBt Dann 
wird ein Verbindungsrahmen 48, in welchem eine Viel- 
25 zahl von Kopfaufhangungen 30 nach Art eines Kammes 
miteinander verbunden ist, gleichzeitig einer Klebung 
auf den Gleiterblock 47 unterworfen (in Fig. 7(a) ge- 
zeigt). Danach wird das Substrat 46 vom Gleiterblock 47 
mittels Atzen entfernt (in Fig. 7(b) gezeigt). Dann wird 
30 jede Kopfaufhangung 30 vom Verbindungsrahmen 48 
abgetrennt (in Fig. 7(c) gezeigt). Auf diese Weise ist die 
Herstellung des Gleiters 20 gemaB der Erfindung voll- 
endet 

Fig. 8(a) bis 8(d) sind Ansichten, die ein Verfahren zur 
35 Ausbildung eines abgeschragten Abschnittes fur die 
Luftlagerschiene zeigen. GemaB diesem Verfahren wird 
eine Opferschicht 51 (Al) auf einem Si-Substrat 46 gebil- 
det Dann wird ein Fotoresisdack 52 auf die Opfer- 
schicht 51 aufgetragen und belichtet In diesem Fall wird 
40 die Belichtung in einer solchen Weise durchgefuhrt, daB 
die auf den abgeschragten Abschnitt aufgebrachte Be- 
lichtungsmenge kleiner als die auf andere Abschnitte 
aufgebrachte Belichtungsmenge ist und nach und nach 
reduziert wird (in Fig. 8(a) gezeigt). Dieses Verfahren 
45 wird gewohnlich als Verfahren eingesetzt, um ein Foto- 
resistlackmuster als dreidimensionale Form auszubil- 
deri. Dieses Verfahren ist beispielsweise in der japani- 
schen ungepruften Patentverdffentlichung Nr. 
61-107514 oder in den folgenden Dokumenten beschrie- 
50 ben worden. 

W. Henke, W. Hoppe, H.J. Quenzer, P. Staudt-Fisch- 
back und B. Wagner "Simulation and Experimental Stu- 
dy of Gray-Tone Lithography for the Fabrication of 
Arbitrarily Shaped Surface" IEEE, Micro Electro Me- 
ss chanical Systems, S. 205, 1994. 

Der FotoresistJack wird entwickelt, so daB der abge- 
schragte Abschnitt 53 ausgebildet wird (in Fig. 8(b) ge- 
zeigt). Dann wird die Opferschicht mittels Ionenfrasen 
(lonenabtrag) oder Sputter-Atzen geatzt (in Fig. 8(c) 
60 gezeigt), so daB das Muster der Opferschicht 51 mit dem 
abgeschragten Abschnitt 54 fertiggestellt wird (in 
Fig. 8(d) gezeigt). Danach wird eine Opferschicht Uber 
der gesamten Oberflache gebildet und sodann wird eine 
Luftlagerschiene (in der Zeichnung nicht gezeigt) aus 
65 Si0 2 auf der Opferschicht 5 i gebildet 

Fig. 9(a) und 9(b) sind Ansichten, welche eine andere 
AusfOhrung des Verfahrens zum Bilden eines abge- 
schragten Abschnittes fur die Luftlagerschiene zeigen. 
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GemaB dieser Ausfiihrung ist es anders ais bei dem in 
den Fig. 8(a) bis 8(d) gezeigten Verfahren nicht erfor- 
derlich, die aus Al hergestellte Opferschicht 51 zu bil- 
den; der Fotoresistlack 52 wird auf das Substrat 46 auf- 
getragen. Dann wird der Fotoresistlack 52 belichtet, wo- 
bei die Menge des Belichtungslichtes eingestellt wird (in 
Fig. 9(a) gezeigt). Danach wird der Fotoresistlack 52 
durch Warme oder Ultraviolettstrahlen gehartet, so daB 
die Opferschicht gebildet werden kann. Alternativ dazu 
wird eine Opferschicht fiber der gesamten Oberflache 
gebildet. In diesem Zusammenhang sei erwahnt, dafl der 
gehartete Fotoresistlack aus einem Material hergestellt 
sein kann, welches bei der Atz-Trennung nicht aufgelost 
wird Alternativ dazu konnten nicht nur die abgeschrag- 
ten Abschnitte sondern die gesamten Luftlagerschienen 
aus Fotoresistlack gemacht werden. 

GemaB den oben beschriebenen Ausffihrungen wer- 
den der AnschluBpadbereich und der Gieiterkorper 
gleichzeitig aus einem Leitermaterial gebildet. Es ist 
deshalb moglich, einen Gleiter zu bilden, ohne Durch- 
gangsoffnungen in einem Silizium- Board auszubilden 
oder ein Glassubstrat zu kleben. Demzufolge ist es mog- 
lich, einen Dunnfilm-Magnetkopf gleiter hoher Leistung 
und mit geringen Kosten zu schaffen. 

Fig. 10(a) bis 10(c) sind Ansichten, welche die zweite 
Ausfuhrung des Dtlnnfilm-Magnetkopfgleiters gemafl 
der vorliegenden Erfindung zeigen. Fig. 10(a) ist eine 
perspektivische Ansicht des DQnnfilm-Magnetkopf glei- 
ters 110, welcher an der Kopfaufhangung 130 befestigt 
ist, wobei die Ansicht von der Luftlagerflachenseite her 
gesehen ist. Fig. 10(b) ist eine perspektivische Ansicht 
des Dunnfilm-Magnetkopf gleiters 110, bevor dieser an 
der Kopfaufhangung 130 befestigt worden ist, wobei die 
Ansicht von der Riickseite (der der Luftlagerflache ab- 
gewandten Seite) her gesehen ist. Fig. 10(c) ist eine 
Querschnittansicht entlang der Linie B-B' in Fig. 10(b). 

Bereiche der aus Si0 2 oder A1 2 0 3 hergestellten Luft- 
lagerflachenschicht 111 ragen fiber die einem Aufnah- 
memedium gegenuberliegende Luftlagerflache des 
Gleiters 1 10, so daB zwei Luftlagerschienen 1 15 gebildet 40 
werden, welche sich bezuglich des Aufnahmemediums, 
welches sich in der Richtung des Pfeiles A bewegt, von 
der Vorlaufende 113 zur Nachlaufseite 114 erstrecken. 
Es ist eine Mittelschiene 117 an der Voriaufseite 113 



welche an den Enden der parallelen Federn 121 gehal- 
ten werden. Die parallelen Federn 121 der beweglichen 
Komponente und die der beweglichen Komponente ge- 
genuberliegende stationare Komponente sind aus Me- 
5 tall, wie etwa Ni und Cu, hergestellt Sowohl die beweg- 
liche Komponente als auch die stationare Komponente 
sind mit einer metallischen Elektrode an den jeweils 
gegenfiberliegenden Bereichen versehen. Wenn eine 
Spannung zwischen der stationaren Elektrode 123 und 
10 der beweglichen Elektrode 121 angelegt wird, urn eine 
Anziehungskraft zu erzeugen, kann ein Spurvorgang 
(Spureinstellvorgang) ausgeffihrt werden. 

In diesem Zusammenhang sei erwahnt, daB die be- 
wegliche Komponente in einer Weise angeordnet ist, 
15 dafl nur das Kopf element 124 oder das Ende 124a des 
Magnetpols des Kopfelementes zur Seite des Aufnah- 
memediums (nicht gezeigt) hin vorsteht und dafl die 
Antriebselektroden 121, 123 vom Aufnahmemedium ge- 
trennt sind. Der Grund fur die Anwendung der oben 
20 beschriebenen Anordnung ist der, zu verhindern, dafl 
Staub durch die angelegte Spannung zwischen den 
Elektroden 121 und 123 an das Kopfelement 124 ange- 
zogen wird, so daB die Luftlagerkraft des Gleiters 110 
nicht durch den Antriebsbereich beeintrachtigt wird. 
25 Obwohl es in der Zeichnung nicht gezeigt ist, wird es 
bevorzugt, ein Ende des Gleiters 110 an der Seitenperi- 
pherie der Luftlagerflachenseite abzuschragen zu dem 
Zweck, eine Kollision mit dem Aufnahmemedium zu 
verhindern, wenn die Lage des Gleiters 1 10 infolge einer 
Roll- oder Kippbewegung geandert wird. 

In diesem Zusammenhang sei erwahnt, dafl die An- 
schluflpads 118, welche mit einem (nicht gezeigten) An- 
schluBverbindungsabschnitt der Kopfaufhangung 130 
verbunden sind, im Zentrum auf der Riickseite des Glei- 
ters 110 angeordnet sind. In diesem Fall sind zwei Satze 
von AnschluBpads 118 angeordnet, d. h. vier Anschlufl- 
pads 1 18 sind vorgesehen. Ein Satz wird fur das Kopf- 
element und der andere Satz fur den Spurmechanismus 
verwendet 

Fig. 11(a) und 11(b) sind Ansichten, welche Abwand- 
lungen des Spurmechanismus 120 zeigen. In der in 
Fig- H(a) gezeigten Abwandlung ist eine Oberflache 
der stationaren Elektrode 123, die der in Fig. 10(c) ge- 
zeigten beweglichen Elektrode 121 gegenuberliegt, ge- 
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zwischen den beiden Luftlagerschienen 115 vorgesehen. 45 krttmmt, und die parallele Feder 121 der beweglichen 



Der Korper 112 des Gleiters 110 und die AnschluBpads 
1 18 (in Fig. 1 0(b) gezeigt), welche auf der ROckseite der 
Luftlagerflachenschicht 111 gebildet sind, werden einer 
metallischen Plattierung mit Ni unterworfen. 

Es ist ein Element-Antriebsmechanismus 120 (in die- 
ser Ausgestaltung ein Spurmechanismus) auf der Luftla- 
gerflache 111 zwischen den beiden Luftlagerschienen 
115 und auch zwischen den AnschluBpads 118 und der 
Nachlaufseite 114 vorgesehen. Das heiflt, daB die metal- 
lische Plattierschicht aus Ni auf dem Korper des Glei- 
ters 110 nicht auf dem Element-Antriebsmechanismus 
120 vorgesehen ist. Die Lange des Gleiters 110 von der 
Voriaufseite 113 bis zur Nachlaufseite 114 ist beispiels- 
weise 0,5 bis 0,8 mm, seine Breite ist 03 bis 0,6 mm und 
seine Dicke ist 0,04 bis 0,06 mm. 

Wie in der Querschnittsansicht der Fig. 10(c) gezeigt 
ist, verwendet der Element-Antriebsmechanismus der 
zweiten Ausfiihrung, d. h. der Spurmechanismus 120 der 
zweiten Ausfiihrung eine elektrostatische Anziehungs- 
kraft. Eine bewegliche Komponente umfaflt zwei paral- 
lele Federn 121 (von denen in der Zeichnung nur eine 
gezeigt ist), die sich vom stationaren Bereich aus er- 
strecken, sowie zwei Element- Montageabschnitte 122, 



Komponente wird entlang der gekrummten Oberflache 
der stationaren Elektrode 123 deformiert. Infolge der 
vorstehend beschriebenen Ausgestaltung ist die GrOBe 
der Auslenkung erhoht. In der in Fig. 11(b) gezeigten 
50 Abwandlung sind die bewegliche Komponente 121 und 
die stationare Komponente 123 aus kammformigen 
Elektroden 121a und 123a ausgebildet In diesem Fall 
wird eine Anziehungskraft in einer Richtung parallel zur 
Langsrichtung der kammformigen Elektroden erzeugt 
55 Durch die oben beschriebene Anziehungskraft wird der 
Spurvorgang ausgeffihrt. 

Fig. 12(a) und 12(b) sind Ansichten, die eine dritte 
Ausgestaltung des Dunnfilm-Magnetkopf gleiters ge- 
maB der vorliegenden Erfindung zeigen, bei welchem 
60 der Spurmechanismus 120 in eine der Luftlagerschienen 
115 eingebaut ist. Wenn der Antriebsabschnitt 120 in die 
Luftlagerschiene 115 eingebaut wird, wie in dieser Aus- 
gestaltung gezeigt ist, kann eine Flache des Bereiches, 
wo die AnschluBpads 118 angeordnet sind, vergroBert 
65 werden, und auBerdem kann der Gleiter kompakt aus- 
geffihrt werden. In dieser Ausgestaltung kann ein belie- 
biger der Spurantriebsmechanismen 120, die in den 
Fig. 10(cX 1 1(a) und 11(c) gezeigt sind, verwendet wer- 
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den. Wie zuvor beschrieben wurde, ist es jedoch zu 
bevorzugen, daB die Elektroden 121, 123 mit Bezug auf 
die Oberflache der Luftiagerschienen 115 einseitig (auf 
der Seite des Hauptkorpers 112) angeordnet sind, so 
daB die Elektroden 121, 123 von einem Aufnahxnemedi- 
um (nicht gezeigt) getrennt bleiben konnen. GemaB der 
vorstehenden Beschreibung kann die durch die angeleg- 
te Spannung zwischen den Elektroden verursachte An- 
ziehung von Staub verhindert werden, und weiter kann 
eine zwischen der Elektrode und dem Aufnahmemedi- 
um erzeugte elektrische Entladung verhindert werden. 

Fig. 13(a) und 13(b) sind Ansichten, welche den Dfinn- 
film-Magnetkopf der vierten AusgestaJtung der vorlie- 
genden Erfindung zeigen, bei welcher ein Lade- und 
Entlademechanismus vorgesehen ist Dieser Lade- und 
Entlademechanismus 120A kann zwischen den Luftiag- 
erschienen 115 wie bei der ersten Ausgestaitung ange- 
ordnet sein, oder dieser Lade- und Entlademechanismus 
120A kann alternativ dazu in die Luftlagerschiene 115 
eingebaut sein, wie bei der zweiten Ausgestaitung. 

In dieser Ausgestaitung ist die Feder 121 der bewegli- 
chen Komponente oberhalb der Luftlagerflachen- 
schicht 111 des Gleiters angeordnet, wobei ein kleiner 
Zwischenraum zwischen der Feder 121 und der Luftla- 
gerflachenschicht 111 ausgefiihrt ist; der Kopfelement- 
Montageabschnitt 122 ist an einem Ende der Feder 121 
vorgesehen. Wenn eine Spannung zwischen der statio- 
naren Elektrode 123 und der beweglichen Elektrode 121 
angelegt wird, welche an der Seite der Luftlagerflachen- 
schicht 111 vorgesehen ist, wird die bewegliche Kompo- 
nente 121 zur Luftiagerflachenschicht 111 hin gezogen. 
Entsprechend der vorstehenden Beschreibung nahert 
sich das Kopf element 124 dem (nicht gezeigten) Auf- 
nahmemedium oder kommt mit diesem in Kontakt. In 
diesem Zusammenhang sei erwahnt, daB bei diesem Me- 
chanismus eine Spannung auf folgende Weise aufge- 
pragt werden kann. Nach dem Start der Drehung des 
Aufnahmemediums kann die Spannung angelegt wer- 
den, und unmittelbar vor dem Stop des Aufnahmeme- 
diums wird die Spannungszufuhr gestoppt Alternativ 
dazu kann die Spannungszufuhr gestartet bzw. gestoppt 
werden, indem sie mit dem Betrieb des Kopfelementes 
124 gekoppelt wird. 

In diesem Zusammenhang sei erwahnt, daB bei den in 
den Fig. 10 bis 13(a) und 13(b) gezeigten AusgestaJtun- 
gen dann, wenn die Mittelschiene in der Mitte der Vor- 
laufseite 113 des Gleiters 110 und die Seitenschienen an 
beiden Seiten in der Nahe der Nachlauf seite angeordnet 
sind, so daB ein eine Schwebekraft erzeugender Bereich 
an jeder Ecke der im wesentlichen dreieckigen Figur 
gebildet ist, es zu bevorzugen ist, daB der Spurmechanis- 
mus 120 oder der Lade- und Entlademechanismus 120 A 
innerhalb des Dreieckes angeordnet sind. Der Grund 
wird wie folgt beschrieben. Auch wenn der Gleiter 
durch die Restspannung, die in jeder Schicht bei der 
Herstellung des Gleiterkorpers und der Luftlagerflache 
erzeugt wird, deformiert wird, werden deshalb, weil es 
drei Punkte gibt, an denen eine Lufdagerkraft erzeugt 
wird und weil deshalb der Antriebsmechanismus und 
das Kopfelement innerhalb des Dreieckes angeordnet 
werden kdnnen, diese seiten durch die Schwankungen 
einer Flughohe beeintrachtigt, so daB der Flugvorgang 
stabilisiert werden kann. 

Fig. 14(a) und 14(b) sind schematische Darstellungen, 
in denen das Prinzip des fur den Antriebsmechanismus 
der vorliegenden Erfindung verwendeten elektrostati- 
schen Stellantriebes mit dem Prinzip des fur den An- 
triebsmechanismus beim Stand der Technik verwende- 



ten elektrostatischen Stellantriebes verglichen wird. Ei- 
ne der beiden einander gegenflberliegenden kammfdr- 
migen Elektroden ist ein stationarer Abschnitt 131, und 
die andere ist ein beweglicher Abschnitt 132. Wenn zwi- 
5 schen den beiden kammfdrmigen Elektroden eine Span- 
nung angelegt wird, wird der bewegliche Abschnitt 132 
urn eine auBerst kleine Distanz gegenuber dem stationa- 
ren Abschnitt 131 verstellt Dieser Typ eines elektrosta- 
tischen Stellantriebes wird wie folgt hergestellt Bei- 
io spielsweise ist auf einem Siliziumsubstrat, auf das ein 
thermisch oxidierter Film aufgetragen ist, ein als Isolier- 
schicht dienender Film aus Si3N4, ein als Opferschicht 
verwendeter PSG-Film (phosphosilicate glass =* 
Phosphosilikat-Glas) und ein als kammfdrmige Elektro- 
15 de verwendeter Film aus Polysilizium von 2 \im Dicke 
vorgesehen. Der Polysiiizium-Film wird einer Plasma- 
Atzung unterworfen, so daB der Polysilizium-Filra in 
eine vorgegebene Form gebracht wird. Zuletzt wird die 
Opferschicht mittels NaBatzung entfernt, um den be- 
20 weglichen Abschnitt 132 zu erhalten, 

Bei dem in Fig. 14(a) gezeigten elektrostatischen 
Stellantrieb aus dem Stand der Technik ist ein Zahn am 
beweglichen Abschnitt 132 in einer Zwischenposition 
zwischen zwei benachbarten Zahnen an dem stationa- 
25 ren Abschnitt 131 angeordnet und es wird eine Span- 
nung zwischen den beiden einander gegenuberliegen- 
den kammfdrmigen Elektroden angelegt; es wird eine 
Kraft in einer Richtung erzeugt derart, daB die Eingriffs- 
lange der kammfdrmigen Elektroden vergrofiert wer- 
30 den kann. Bei dem in Fig. 14(b) gezeigten elektrostati- 
schen Stellantrieb gemaB der vorliegenden Erfindung 
ist andererseits ein Zahn an der Seite des beweglichen 
Abschnittes 132 in einer Position angeordnet, die von 
der Zwischenposition zwischen zwei benachbarten Zah- 
35 nen des stationaren Abschnittes 131 abweicht, so daB 
eine Kraft in einer Richtung senkrecht zur Zahnlange 
erzeugt wird. Ein Unterschied zwischen dem elektrosta- 
tischen Stellantrieb gemaB dem Stand der Technik und 
dem gemaB der vorliegenden Erfindung wird im folgen- 
40 den beschrieben. 

Bei dem elektrostatischen Stellantrieb gemaB dem 
Stand der Technik ist der Zahn am beweglichen Ab- 
schnitt 132 in einer Zwischenposition zwischen zwei be- 
nachbarten Zahnen am stationaren Abschnitt 131 ange- 
45 ordnet, und es wird eine Kraft in horizontaler Richtung 
(X- Richtung) in der Figur erzeugt Die Intensitat F x der 
in der X- Richtung erzeugten Kraft ist durch die Glei- 
chung F x = V 2 eot/g ausgedruckt, wobei g ein Zwischen- 
raum zwischen dem Zahn am stationaren Abschnitt 131 
so und dem Zahn am beweglichen Abschnitt 132 ist, t ist die 
Dicke des Zahnes, V ist eine anzulegende Spannung und 
So ist eine dielektrische Konstante im Vakuum. 

Bei dem elektrostatischen Stellantrieb gemaB der 
vorliegenden Erfindung gibt es andererseits, wenn man 
55 den Abstand zwischen dem Zahn an dem stationaren 
Abschnitt 131 und dem Zahn an dem beweglichen Ab- 
schnitt 132 betrachtet, zwei Arten von Zwischenraumen. 
Einer ist ein enger Zwischenraum gi und der andere ist 
ein breiter Zwischenraum g2. Es ist deshalb moglich, 
SO eine Differenz zwischen einer Kraft in der Y-Richtung 
(der Richtung senkrecht zur Zahnlange), welche im Zwi- 
schenraum gi erzeugt wird, und einer Kraft in der 
Y-Richtung, die im Zwischenraum g2 erzeugt wird, zu 
nutzen. In diesem Fall ist die Intensitat der Kraft F y — 
65 (1/2) V 2 eotL(l/gi 2 - l/g 2 2 ). Wenn g ( =g und l/g 2 2 < 
l/gi 2 dann ist die Darstellung von F y /F x » L/2g erfilllt 
Im Falle von L > 2g erzeugt der elektrostatische Stell- 
antrieb gemaB der vorliegenden Erfindung eine groBere 
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Kraft als der elektrostatische Stellantrieb aus dem 
Stand der Technik. Wean beispielsweise der Spalt so 
ausgebildet ist, daB er g « 1 pin ist, und wenn der Zahn 
so ausgebildet ist, daB L = 200 urn ist, kann eine Kraft 
erzeugt werden, deren Intensity 1 OOmal so hoch wie die 5 
des elektrostatischen Stellantriebes gemaB dem Stand 
der Technik ist, da ja eine in g 2 erzeugte Kraft in einer 
Richtung wirkt, daB sie eine in gt erzeugte Kraft auf- 
hebt Demzufolge ist vorzugsweise g2 hoher als gi. 
Wenn allerdings g2 extrem hoch ist, ist die Anzahl der in 10 
einem vorgegebenen Raum ausgebildeten Zahne be- 
grenzt Demzufolge gibt es einen Optimalwert bezug- 
lich des Wertes von gj/g2. In dem Fall, wo L ausreichend 
hoher als g u g 2 und w ist, ist das Verhaltnis zwischen der 
Kraft (F y ) und gi/g2 wie in Fig. 15 dargestellt Da die 15 
Anzahl der Zahne eine gerade Zahl ist, ist das Dia- 
gramm nicht gleichmaBig, bis der Wert von L genugend 
hoch ist. Auch in diesem Falle wird dann, wenn 2 < g2/gt 

< 3 ist, die Kraft ein Maximum. Es ist praktisch, den 
Bereich 1,5 < g 2 /gi (1,5 < g 2 /gi < 5) oder 1,2 < g 2 /gt 20 

< lOzu verwenden. 

Fig. 16 ist eine Ansicht, die eine Abwandlung des 
elektrostatischen Stellantriebes der vorliegenden Erfin- 
dung zeigt Der auBere Rahmen ist ein Kcrper des sta- 
tionaren Abschnittes 131, welcher mittels Plattieren von 25 
Ni gebildet ist. Der stationare Abschnitt 131 ist auf ei- 
nem in der Figur nicht gezeigten Substrat befestigt An 
der inneren Wand des stationaren Abschnittes 131 sind 
parallele Zahne 131a in regelmaBigen Abstanden vorge- 
sehen, welche zum Innenumfang hin ausgerichtet sind, 30 
wobei die parallelen Zahne 131a mittels Plattieren von 
Ni gleichzeitig mit dem stationaren Abschnitt 131 gebil- 
det werden. Diese Zahne 131a konnen auf dem Substrat 
befestigt sein oder alternativ dazu konnen diese Zahne 
131a unter der Bedingung vorgesehen sein, daB ein 35 
(nicht gezeigter) Zwischenraum zwischen dem Substrat 
und den Zahnen ausgebildet ist. Ein zentraler, innerhalb 
des Rahmens des stationaren Abschnittes 131 angeord- 
neter Bereich ist der Korper eines beweglichen Ab- 
schnittes 132, welcher mittels Plattieren von Ni gleich- 40 
zeitig mit dem Korper des stationaren Abschnittes 131 
gebildet wird. Es ist ein Zwischenraum zwischen dem 
Korper des beweglichen Abschnittes 132 und dem Sub- 
strat vorhanden, so daB der bewegliche Abschnitt 132 
relativ zum stationaren Abschnitt 131 bewegt werden 45 
kann. Am beweglichen Abschnitt 132 ist eine Vielzahl 
von Zahnen 132a vorgesehen, welche parallel zu den am 
stationaren Abschnitt 131 vorgesehenen Zahnen 131a 
angeordnet sind, wobei die Zahne 132a in Positionen 
angeordnet sind, welche den mitten zwischen den be- 50 
nachbarten Zahnen 131a abweichen. In der Figur sind 
Anker 133 vorgesehen, welche an dem Substrat im obe- 
ren und unteren Bereich des beweglichen Abschnittes 
132 befestigt sind Zwischen dem Anker 133 und dem 
beweglichen Abschnitt 132 ist eine Haltefeder 134 vor- 55 
gesehen, die in der Lage ist, den beweglichen Abschnitt 
132 nur in der Aufwarts- und Abwartsrichtung zu bewe- 
gen. Im rechten unteren Bereich des stationaren Ab- 
schnittes 131 ist eine Leitung 135 vorgesehen, die mit 
einem (nicht gezeigten) AnschiuB zu verbinden ist An 60 
dem unteren Halter ist eine Leitung 136 vorgesehen, die 
mit einem (nicht gezeigten) AnschiuB zu verbinden ist. 
Diese Leitungen sind mittels Plattieren mit Ni gebildet 

Wenn eine Spannung zwischen den beiden Leitungen 
135, 136 angelegt wird, dann wird eine elektrostatische 65 
Anziehungskraft zwischen den Zahnen 131a des statio- 
naren Abschnittes 131 und den Zahnen 132a des beweg- 
lichen Abschnittes 132 erzeugt Infolge der obenge- 
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nannten Anziehungskraft wird der bewegliche Ab- 
schnitt 132 nach oben angezogen und in eine Position 
bewegt bei der die Anziehungskraft und eine elastische 
Ruckstellkraf t der Haltefeder 134 ausgeglichen sind. Da 
ja die elektrostatische Anziehungskraft proportional 
zum Quadrat einer elektrischen Potentialdifferenz ist, 
wird der bewegliche Abschnitt 132 in der gleichen Rich- 
tung bewegt, unabhangig von der Polaritat Um jedoch 
den Einflufl von Rauschen zu verhindern, welches dazu 
neigt, ein auf dem beweglichen Abschnitt 132 (in der 
vorliegenden Erfindung der Dunnfilm-Magnetkopf) zu 
befestigendes Objekt zu beeinflussen, wird bevorzugt, 
daB der bewegliche Abschnitt 132 elektrisch geerdet ist 

In diesem Zusammenhang sei erwahnt, daB um das 
Auftreten eines Kurzschlusses zwischen den Zahnen 
131a des stationaren Abschnittes 131 und den Zahnen 
132a des beweglichen Abschnittes 132 im Falle eines 
extrem hohen Spannungseingangs zu verhindern, ein 
Stopper 137 vorgesehen ist, der so ausgebildet ist, daB 
ein Zwischenraum zwischen einem Abschnitt des An- 
kers 133 und dem beweglichen Abschnitt 132 reduziert 
ist Das elektrische Potential des Stoppers 137, d. h. das 
elektrische Potential des Ankers 133 ist das gleiche wie 
das des beweglichen Abschnittes 132, welcher elektrisch 
geerdet ist Es werden deshalb keine Probleme verur- 
sacht, auch wenn der Stopper 137 in Kontakt mit dem 
beweglichen Abschnitt 132 kommt 

Mit Bezug auf die Fig. 17(a) bis 17(e) und die 
Fig. 18(a) bis 18(e) wird nachfolgend ein Verfahren zur 
Herstellung des elektrostatischen Stellantriebes gemaB 
der vorliegenden Erfindung erlautert Diese Ansichten 
sind Querschnittansichten entlang einer Linie A-A in 
Fig. 16. 

In den Fig. 17(a) bis 17(e) wird die Bearbeitung wie 
folgt durchgefuhrt 

(a) Ein Si-Substrat (dessen Kristallebenenindex 
gleich 100 ist), auf dessen beiden Seiten Thermooxi- 
dationsfilme T-Si0 2 ausgebildet sind, wird verwen- 
det 

(b) Nur von einem Bereich, wo der bewegliche Ab- 
schnitt 132, die Zahne 132a des beweglichen Ab- 
schnittes 132, die Zahne 131a des stationaren Ab- 
schnittes 131 und die Haltefeder 134 gebildet wer- 
den, wird der Thermooxidationsfilm T-Si02 auf der 
Substratoberflache mittels lonenabtrag entfernt 

(c) Ein als Opferschkht zu verwendender Al-Film 
wird auf der Substratoberflache mittels Dampfauf- 
trag oder Sputtern gebildet 

(d) Die Al-Opferschicht wird mittels lonenabtrag 
von Bereichen mit Ausnahme des Bereiches, wo der 
Thermooxidationsfilm T-SiC>2 entfernt worden ist, 
entfernt In diesem Fall kann ein kleiner Zwischen- 
raum in der Grenze zwischen der Al-Opferschicht 
und dem Thermooxidationsfilm gebildet werden. 

(e) Eine Schicht aus Ni wird uber der ganzen Ober- 
flache mittels Dampfauftrag oder Sputtern gebil- 
det, so dafl die Ni-Schicht als Keimschicht (engL: 
seed layer) fur das Plattieren verwendet werden 
kann. Diese Keimschicht wird in dem oben erwahn- 
ten Zwischenraum ausgebildet 

In den Fig. 18(a) bis 18(e) wird danach die Bearbei- 
tung wie folgt durchgefuhrt 

(a) Ein Fotoresistlack wird so gemustert, daB er 
negative Muster bildet, welche zum Bilden des sta- 
tionaren Abschnittes 131, des beweglichen Ab- 
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schnittes 132, der Haltefeder 134, des Stoppers 137, welchem die positive Spannung Vi auf die ersten Zahne 
des Ankers 133 und der Leiter 133, 136, die in 131a aufgebracht wird und wenn eine Aufwartskraft 
Fig. 16 dargestellt sind, mittels P!attieren von Ni erzeugt wird, und bei welchem die positive Spannung V 2 
verwendet werden. auf die zweiten Zahne 131b aufgebracht wird und wenn 

(b) Ein Bereich, auf welchem der Fotoresistiack 5 eine Abwartskraft erzeugt wird Fig. 20(c) ist ein Dia- 
nicht aufgetragen ist, wird mit Ni mittels Plattieren gramm, welches einen Fall zeigt bei welchem eine Off- 
von Ni gefiillt setspannung von 1/2 der Hochstspannung auf die ersten 

(c) Der Fotoresistiack wird in einer Losung ent- Zahne 13 la und die zweiten Zahne 13 lb des stationaren 
fernt Abschnittes 131 aufgebracht wird und bei welchem 

(d) Die* gesamte Oberflache wird einem Ionenab- 10 Spannungen Vt und V 2f deren Phasen einander entge- 
trag unterworfen, so daB der Bereich der Keira- gengesetzt sind, Qberlagert werden, urn die Einheit an- 
schicht, welcher nicht mit aufplattiertem Ni be- zutreiben. Wenn Vi und Vj durch Vt — V<> 4- AV und V 2 

i deckt ist, entfernt wird Dieser ProzeB ist nicht auf «* V 0 — AV ausgedriickt werden, wird der folgende 

einen lonenabtrag fiber die gesamte Oberflache be- Ausdruck gebildet 
grenzt; vielmehr kann ein (nicht gezeigter) Fotore- 15 

sist-Schutzlack der gleichen Form auf die durch F y « Vi 2 — V 2 2 = 4VqAV 
Plattieren gebildete Ni-Schicht aufgemustert wer- 
den und dann dieser ProzeB durchgefuhrt werden. Wie im oben stehenden Ausdruck gezeigt ist, ist die 

(e) Wenn die Al-Opferschicht in einer Losung aus Kraft proportional zu AV, so daB sie leicht zu steuern ist 
KOH entfernt wird, wird der bewegliche Abschnitt 20 Das oben beschriebene Verfahren ist von Vorteil, da die 
132 von dem Substrat getrennt, und der bewegliche Einheit ailein durch eine einzige Energiequelle angetrie- 
Abschnitt kann reiativ zum stationaren Abschnitt ben werden kann und die Einheit unter der Bedingung 
bewegt werden. Da ja der Thennooxidationsfiim angetrieben werden kann, daB der bewegliche Ab- 
T-S1O2 unter dem beweglichen Abschnitt 132 schon schnitt elektrisch geerdet ist 

entfernt worden ist, wird das Si-Substrat in diesem 25 Soweit ein bevorzugtes Ausfiihrungsbeispiel betrof- 
Bereich aufgeidst, und die Ldsung aus KOH dringt fen ist, bei welchem der elektrostatische Stellantrieb 
leicht ein, so daB die Atzzeit reduziert werden kann. gemaB der vorliegenden Erfindung angewendet wird so 

kann der elektrostatische Stellantrieb gemaB der vorlie- 
Fig. 19 ist eine Ansicht, welche eine andere Ausge- genden Erfindung in einen Antriebsabschnitt des Spur- 
staltung des elektrostatischen Stellantriebes der vorlie- 30 mechanismus oder des Lade-/Entlademechanismus des 
genden Erfindung zeigt. Der Unterschied zwischen die- Kopfgleiters der Magnetplatteneinheit eingebaut wer- 
ser Ausgestaltung und der in Fig. 16 gezeigten Ausge- den. Ein Betspiel des Kopfgleiters ist in Fig. 21 gezeigt 
staltung ist der, dafl erste Zahne 131a und zweite Zahne Der Gleiter 1 10 ist in einer solchen Weise hergestellt, 
131b des stationaren Abschnittes 131 auf beiden Seiten daB das DQnnfilm-Magnetkopfelement 124 vom hori- 
von Zahnen 132a des beweglichen Abschnittes 132 in 35 zontalen Typ, die Luftlagerfiachenschicht 111 und der 
regelmaBigen Abstanden vorgesehen sind Die ersten Gleiterkorper 112 in einer Reihe von Prozessen herge- 
Zahne 131 a und die zweiten Zahne 131b des stationaren stellt und an die Kopfaufhangung 130 geklebt wird Bei 
Abschnittes 131 sind gegeneinander durch die in der der Magnetplatteneinheit wird eine Such- und Positio- 
Figur gezeigte Isoiierschicht 138 elektrisch isoiiert Es nieroperation der Kopfaufhangung, an welcher der 
ist deshaib mdgiich, verschiedene Spannungen auf die 40 Kopfgieiter 110 montiert ist durch einen Schwingspu- 
ersten Zahne 131a bzw. die zweiten Zahne 131b des lenmotor ausgefuhrt Zusatzlich dazu ist ein Stellantrieb 
stationaren Abschnittes 131 auf zubringeri. Wenn eine fur kleine Stellschritte (in dieser Ausgestaltung ein 
Spannung auf die ersten Zahne 131a des stationaren ' Spurmechanismus) am Kopfgieiter montiert und das 
Abschnittes 131 unter der Bedingung aufgebracht wird DQnnfilm-Magnetkopfelement 124 wird in einem Hoch- 
daB der bewegliche Abschnitt 132 elektrisch geerdet ist 45 frequenzbandbereich gesteuert so daB die Positionier- 
wird der bewegliche Abschnitt 132 in der Zeichnung genauigkeit erhoht und die Aufnahmedichte verbessert 
nach oben bewegt Wenn eine Spannung auf die zweiten werden kann. 

Zahne 131b des stationaren Abschnittes 131 aufge- Um Maschinenbearbeitungsvorgange zum Zwecke 

bracht wird wird der bewegliche Abschnitt 132 in der einer Reduzierung der Herstellungskosten zu verrin- 
Figur nach unten bewegt Infolge des Aufbaus dieser 50 gern, wie spater beschrieben wird sind gemaB der vor- 
Ausgestaltung kann der bewegliche Abschnitt 132 in der liegenden Erfindung der Horizontalkopf 124 (Planar- 
Figur nach oben und nach unten bewegt werden. Des- kopf) und die Luftlagerfiachenschicht 111 (Si0 2 ) auf 
halb kann der Bewegungshub auf das Zweifache des dem Substrat auf der Opferschicht gebildet; nachdem 
Hubes bei der in Fig. 16 gezeigten Ausgestaltung er- der Gleiterkorper 112 mittels Plattieren von Ni gebildet 
hoht werden. 55 worden ist, wird die Opferschicht entfernt so daB der 

Die Fig. 20(a) bis 20(c) sind Diagramme, welche Bei- Gleiter 110 vora Substrat getrennt wird Weiter ist ge- 
spiele von auf die ersten Zahne 131a und die zweiten maB der vorliegenden Erfindung ein Antriebsmechanis- 
Zahne 131b der stationaren Komponente 131 der in mus 120 des elektrostatischen Stellantriebes vorgese- 
Fig. 19 gezeigten Ausgestaltung auf gebrachter Span- hen, um den Elementabschnitt 124 im Kopfgieiter 110 in 
nung zeigen. Was die Richtung der Kraft F betrifft so ist 60 kleinen Schritten in der Spurrichtung anzutreiben. 
die Aufwartsrichtung in der Figur als positive Richtung Fig. 22 ist eine Querschnittansicht welche den 
definiert Fig. 20(a) ist ein Diagramm, welches einen Fall Schnittaufbau des Kopfgleiters 110 gemaB der Erfin- 
zeigt bei welchem die positive Spannung V| auf die dung zeigt Auf dem Substrat 140 ist eine Opferschicht 
ersten Zahne 131a aufgebracht wird und wenn eine Auf- 141 aus Al vorgesehen, deren Form der Form der Luft- 
wartskraft erzeugt wird und bei welchem die negative 65 lagerflache entspricht Ein Horizontalkopfelement 124 
Spannung V2 auf die zweiten Zahne 131b aufgebracht ist auf der Opferschicht 141 ausge bildet. Danach wird 
wird und wenn eine Abwartskraft erzeugt wird ein Film aus Si02, welcher eine Luftlagerfiachenschicht 
Fig. 20(b) ist ein Diagramm, welches einen Fall zeigt, bei 111 werden wird, gebildet Diese Oberflache bildet eine 
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Luftlagerflache zum Arbeitsmedium hin (in der Zeich- 
nung nicht gezeigt). In Fig. 22 umfassen die mit 142 
bezeichneten Schichten: Ein Kopfelement, eine Leiter- 
musterschicht (Au) zum Verbinden jedes Bereiches des 
elektrostatischen Stellantriebes mit jedem AnschluB, ei- 
ne Isolierschicht (Si0 2 ) und eine Keimschicht (Ni) zum 
Plattieren von Ni. Ein bewegiicher Abschnitt 143 des 
elektrostatischen Stellantriebes, ein stationarer Ab- 
schnitt 144 und eine Haltefeder werden oberhalb der 
Schicht 142 mittels Plattieren zusammen mit dem Gleit- 
erkdrper 112 und dem AnschluB 118 gebildet Danach 
kann zusatzlich eine Piattierung ausgefuhrt werden, urn 
die Steifigkeit des Gieiterkorpers mit Ausnahme des 
beweglichen Abschnittes 143 des Stellantriebes zu erho- 
hen. Dann wird auf der obersten Schicht eine KJebe- 
schicht 145 aus Au gebildet und an die Kopfaufhangung 
130 geklebt, wie in Fig. 21 gezeigt ist Wenn die Opfer- 
schicht 141 in einer Losung aus KOH aufgeldst wird, 
wird der Kopfgleiter 110 von dem Substrat 140 ge- 
trennt 

Die Spannung fur das Wiedergabesignal der Magnet- 
kopfeinrichtung ist in der GrSBenordnung von mV. An- 
dererseits ist eine Spannung zum Antreiben des elektro- 
statischen Stellantriebes einige 10 Volt Demzufoige be- 
steht eine Moglichkeit, daB das Wiedergabesignal be- 
eintrachtigt wird, wenn der Stellantrieb betrieben wird. 
Allerdings ist gemaB der vorliegenden Erfindung der 
bewegliche Abschnitt 143, auf welchem das Kopfele- 
ment 124 montiert ist, elektrisch geerdet, wie oben be- 
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einen Kopfgleiter, die Bezugszahl 111 eine Luftlagerfla- 
chenschicht (Si0 2 ), welche einem Aufnahmemedium ge- 
genUberliegt ; 1 12 einen Gleiterkorper (Ni); 1 15 eine Sei- 
tenschiene (Druckerzeugungspad); 117 eine Mittel- 
schiene (Druckerzeugungspad); 118 jeweils AnschlQsse; 

151 einen stationaren Abschnitt; 152 einen beweglichen 
Abschnitt, in welchem ein Kopfelement vorgesehen ist; 
153 einen Stopper; 154 eine Haltefeder zum Hahen des 
beweglichen Abschnittes 152; 155 eine Isolierschicht; 
156 eine Elektrode; 157 einen an den Seitenschienen 115 
und der Mittelschiene 117 vorgesehenen Vorsprung, 
wobei der Vorsprung zur Seite des Aufnahmemediums 
hin vorspringt; und 158 eine Oberflachenschutzschicht 
(DLC). 

In dieser Ausgestaltung ist der bewegliche Abschnitt 

152 innerhalb eines Dreieckes angeordnet, welches aus 
drei Druckerzeugungspads 115, 117 gebildet wird. Der 
bewegliche Abschnitt 152 wird von der Haltefeder 154 
so gehalten, daB der bewegliche Abschnitt 152 in der 

20 Querrichtung X (der Spurrichtung) gegenuber dem sta- 
tionaren Abschnitt 151 verstellt werden kann, und fer- 
ner so, daB der bewegliche Abschnitt 152 in der Auf- 
warts- und Abwartsrichtung Z (der Lade- und Entlade- 
richtung) verstellt werden kann. In der gleichen Weise 
25 wie bei der in Fig. 16 gezeigten Ausgestaltung haben 
der stationare Abschnitt 151 und der bewegliche Ab- 
schnitt 152 jeweils eine Vielzahl von paralleien Zahnen 
151a und 152a. Die Zahne 152a des beweglichen Ab- 
schnittes sind in Positionen angeordnet, die jeweils von 



10 



15 



schrieben wurde. Ferner kann ein Signalleiter zum 30 der Mitte zwischen den benachbarten beiden Zahnen 



Obertragen eines Signals vom Kopfelement 124 zum 
AnschluB 118 durch das unterhalb des beweglichen Ab- 
schnittes 143 angeordnete Leitermuster durch die Iso- 
lierschicht hindurch angeordnet werden, und kann auch 



151a des stationaren Abschnittes abweichen. Wenn eine 
Spannung zwischen dem beweglichen und dem statio- 
naren Abschnitt angelegt wird (der bewegliche Ab- 
schnitt 152 ist geerdet), dann wird der bewegliche Ab- 



entlang der Haltefeder 134 (in den Fig. 16 und 19 ge- 35 schnitt 152 gegenuber dem stationaren Abschnitt 151 in 



zeigt) angeordnet werden, welche den beweglichen Ab 
schnitt 143 des Stellantriebes mit dem stationaren Ab 
schnitt 144 verbindet. Da die Haltefeder 134 auch geer- 
det ist, ist der Signalleiter abgeschirmt, so daB das Signal 
selten durch das Rauschen beeintrachtigt wird. 

Mit dem elektrostatischen Stellantrieb gemaB der 
vorliegenden Erfindung ist es mdglich, eine Kraft zum 
Bewegen des beweglichen Abschnittes in der Richtung 
der Zahnbreite zu erzielen. Deshalb ist der Krafterzeu- 



der X-Richtung in eine Position verstellt, bei der die 
elektrostatische Anziehungskraft und eine elastische 
Kraft der Haltefeder 154 ausgeglichen sind. 

Wie in Fig. 24 gezeigt ist, ist das am beweglichen 
40 Abschnitt 152 vorgesehene Kopfelement 152b so expo- 
niert, daB es einer Oberflache des Aufzeichnungsme- 
diums (nicht gezeigt) gegenuberliegt Andererseits ist 
bei einem Stellantrieb, welcher einen von dem Kopfele- 
ment 152b abweichenden Teil des beweglichen Ab- 



gungswirkungsgrad des elektrostatischen Stellantriebes 45 schnittes 152 umfaflt, der stationare Abschnitt 151 und 



gemaB der Erfindung hoher als der Krafterzeugungs 
wirkungsgrad des elektrostatischen Stellantriebes ge 
maB dem Stand der Technik. Wenn dieser Stellantrieb 
auf dem Kopfgleiter montiert wird, kann der Kopfglei- 



die Haltefeder 154 durch einen Abdeckabschnitt 151b 
des Gleiterk6rpers abgedeckt. Deshalb wird verhindert, 
daB der Stellantrieb zur Oberflache des Aufnahmeme- 
diums hin exponiert ist Auf diese Weise wird verhindert. 



ter und der elektrostatische Stellantrieb in einem Kor- 50 daB der Stellantrieb unerwartet mit dem Aufnahmeme- 

per integriert werden. Beim HerstellungsprozeB ist es dium in Beruhrung kommt 

nicht ndtig, eine Maschinenbearbeitung auszufuhren. Es Wenn eine Spannung an die Elektrode 156 angelegt 

ist moglich, einen Prazisionskopfgleiter zu schaffen, wel- wird, die in dem einem flachen Bereich des beweglichen 

cher in der Lage ist, den Kopf mit Genauigkeiten von Abschnittes gegenuberliegenden stationaren Abschnitt 

weniger ais einem Mikron uber eine Strecke von 1 urn 55 vorgesehen ist, wird der bewegliche Abschnitt 152 urn 



zu posiuonieren. 

Fig, 23 bis 26 sind Ansichten, welche eine Ausfuhrung 
des Kopfgleiters zeigen, in welchen ein elektrostatischer 
Stellantrieb eingebaut ist, welcher in der Lage ist, in der 
Spurrichtung und in der Lade-/Entladerichtung zu wir- 
ken. Diese Ansichten sind zur Vereinfachung in der Dik- 
kenrichtung vergroflert dargestellt Fig. 23 ist eine per- 
spektivische Ansicht des Gleiters, wobei die Ansicht von 
der Luftlagerflachenseite her gesehen wird Fig. 24 ist 



einen sehr kleinen Abstand in der Z- Richtung durch 
eine elektrostatische Anziehungskraft verstellt, die auf 
den beweglichen Abschnitt 152 wirkt und die einer 
Kraft der Haltefeder 154 entgegenwirkt Demzufoige 
60 tragt die Kopfaufhangung 154 auch den beweglichen 
Abschnitt 152, so daB der bewegliche Abschnitt in der 
Z- Richtung verstellt werden kann. 
In diesem Zusammenhang sei erwahnt, dafl in der in 



Fig. 25 gezeigten Ausgestaltung die Vorsprimge 157 aus 
eine teilweise geschnittene Ansicht des in den Kopfglei- 55 oberflachenschmierendem Material gebildet sind, wie 
ter eingebauten elektrostatischen Stellantriebes. Fig. 25 etwa diamantartiger Kohle (DLC\ so daB die Schmier- 
und 26 sind Ansichten in Richtung des Pfeiles A. eigenschaft zwischen dem Kopfgleiter 110 und dem 

In diesen Ansichten bezeichnet die Bezugszahl 110 Aufnahmemedium verbessert werden kann- Bei der in 
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Fig. 26 gezeigien Ausgestaltung sind die Vorsprunge 
157 als Bereiche der Schwebeflachenschicht ill (Si0 2 ) 
gebildet, und die gesamte Luftlagerflachenschicht 111, 
welche diese Vorsprunge 157 enthalt, ist mit der oberfla- 
chenschmierenden Schicht 158 (DLC) uberdeckt 5 

Wie in Fig. 23 gezeigt ist, ist bei dieser Ausgestaltung 
die Form des Gleiterkdrpers zu einem Polygonalprisma 
geformt, welches stumpfwinklige Abschnitte aufweist 
Der Zweck ist die Gewichtsreduzierung durch Entfer- 
nen nicht erforderlicher Teile von den beiden Seiten des io 
mittleren Druckerzeugungspads, welches in einem 
rechtwinkligen Quaderkdrper angeordnet tst Wenn die 
nicht erforderlichen Teile von den beiden Seiten des 
mittleren Druckerzeugungspads entfernt worden sind, 
kann die Moglichkeit einer Kollision des ICopfgleiters 15 
mit dem Aufnahmemedium fUr den Fall einer Rollbewe- 
gung oder Kippbewegung des Kopfgleiters reduziert 
werden. Wenn ferner der auBere Umfang des Gleiters 
und die Druckerzeugungspads abgefast werden, wird 
das Aufnahmemedium sogar im Falle einer KoIIision des 20 
Kopfgleiters mit dem Aufnahmemedium seiten bescha- 
digt In diesem Fall ist die abgefaste Flache nicht auf 
eine R- Flache (abgerundete Oberflache) beschrankt 
Wenn die abgefaste Flache zu einer C- Flache (abge- 
schragte Oberflache) gef ormt wird, kann ein ahnlicher 25 
Effekt erreicht werden. 

Wenn der Kopfgleiter gemaB der vorliegenden Erfin- 
dung hergestellt wird, ist es nicht erforderlich, eine Ma- 
schinenbearbeitung durchzuftihren. Der Kopfgleiter ge- 
mafl der vorliegenden Erfindung wird durch den auf 30 
Fotolithographie basierenden ProzeB hergestellt Dem- 
zufolge ist es moglich, die zuvor beschriebene kompii- 
zierte Form ohne Erhdhung der fur die Fabrikation er- 
forderlichen Zeit und Kosten herzustellen. 

Dies ist eine Ausgestaltung, bei welcher der Spurver- 35 
stellantrieb, der zum Antreiben in der Lade- und Entla- 
derichtung bestimmte Stellantrieb und der Lese- 
/Schreibkopf (Induktivkopf) auf dem Kopfgleiter mon- 
tiert sind. Zwei elektrostatische Stellantriebe erfordern 
drei Anschlusse, wahrend die beweglichen Abschnitte 40 
auf einem gemeinsamen elektrischen Potential gehalten 
werden, d. h. die beweglichen Abschnitte sind geerdet, 
und der Kopf erfordert zwei Anschlusse. In dieser Aus- 
gestaltung wird das elektrische Potential des bewegli- 
chen Abschnittes des Stellantriebes auf dem gleichen 45 
elektrischen Potential wie dem des Gleiterkorpers ge- 
halten, so daB der Gleiterkorper als ein AnschluB ver- 
wendet wird; der bewegliche Abschnitt wird mit dem 
Leitermuster an der Kopf aufhan gun g zusammen mit 
den in der Zeichnung gezeigten vier Anschlussen ver- 50 
bundea 

In der bevorzugten Ausgestaltung hat wie in Fig. 23 
gezeigt ist, der Kopfgleiter 110 eine im wesentlichen 
polygonale Form derart, daB das Vorlaufende desselben 
an den jeweiligen Seiten mit abgeschragten oder 55 
stumpfwinkligen Bereichen versehen ist, & h. die Breite 
des Kopfgleiters 110 ist in der horizontalen Oberflache 
nach und nach zum Vorlaufende hin reduziert So wird 
verhindert daB der Kopfgleiter 110 mit dem Aufnahme- 
medium (nicht gezeigt) in Kontakt kommt Derartige go 
stumpfwinklige Bereiche kdnnen jedoch in alien ande- 
ren Bereichen des Kopfgleiters 110 vorgesehen werden, 
abhangig von der Anordnung der Vorsprunge 157. 
Wenn beispielsweise ein Kopfgleiter 110 zwei Seiten- 
schienen 1 15 an den Vorlaufenden und eine einzige Mit- 65 
telschiene 117 am Nachlaufende hatte, wurden die abge- 
schragten oder stumpfwinkligen Bereiche an den jewei- 
ligen Seiten des Nachlauf endes vorgesehen sein. 



Fig. 27(a) bis 27(d) sind Ansichten, die eine Ausgestal- 
tung des Kopfgleiters zetgen, bei welchem piezoelektri- 
sches Material fur den Antriebsabschnitt verwendet 
wird Es ist ein Mechanismus 120 zum Antreiben des 
Kopfes um einen sehr kleinen Abstand in einem Ab- 
schnitt es Gleiters vorgesehen. Der Kopfantriebsab- 
schnitt 120 ist in der Form eines Auslegers so ange- 
bracht, daB der an dem Ende (dem Kopfmontageab- 
schnitt 122) angebrachte Kopf 124 gehalten werden 
kann. Ein aus ZnO oder PCT hergestellter piezoelektri- 
scher Film wird auf den Ausleger aufgebracht Wenn 
demnach der piezoelektrische Film um eine auBerst 
kleine Distanz verstellt wird, kann der Kopf bewegt 
werden. 

In diesem Ball steht der Kopfantriebsabschnitt 120 
nicht von der Luftlagerflache vor, d. h. der Kopfan- 
triebsabschnitt 120 ist auf einer oberen Oberflachensei- 
te des Luftlagerabschnittes angeordnet Ein Magnetpol 
124 des Kopfes 124 steht nur zu einem Teil uber die 
Luftlagerflache. In diesem Teil wird das (nicht gezeigte) 
Aufnahmemedium der Lese- und Schreiboperation un- 
terworfen. 

Als nachstes wird der Antriebsabschnitt 120 zum Ver- 
stellen des Kopfes erlautert Wie zuvor beschrieben 
wurde, wird ein dunner Film des piezoelektrischen Ele- 
mentes 124 auf den Elementmontageabschnitt 122 des 
Auslegers zum Hal ten des Kopfes aufgetragen. 

Fig. 27(d) ist eine vergroBerte Querschnittsansicht 
die den Ausleger des Antriebsabschnittes 120 zeigt Mit 
der Bezugszahl 161 ist eine Opferschicht (Al) bezeich- 
net die in dem nachfolgenden ProzeB entfernt werden 
soil; mit 162 ein Kohlefilm; mit 163 eine Kopfverdrah- 
tung; mit 164 ein Schild; mit 165 eine untere Elektrode 
fur die Piezoelektrizitat; mit 166 eine ZnO-Schicht, die 
fur einen piezoelektrischen Dunnfilm verwendet wird; 
mit 167 eine Si02-Schicht; mit 168 eine obere Elektrode 
fur die Piezoelektrizitat und mit 169 eine obere Schutz- 
schicht(Si0 2 ). 

Wie in der Zeichnung gezeigt ist, ist die obere Elek- 
trode 168 bezuglich der Mitte in zwei Abschnitte 168a, 
168b geteilt Unter der Bedingung, daB die untere piezo- 
elektrische Elektrode 165 geerdet ist, wenn eine Span- 
nung, deren Phasen zueinander entgegengesetzt sind, an 
eine Elektrode 168a bzw. die andere Elektrode 168b 
angelegt wird, werden auBerst kleine Verschiebungen, 
deren Phasen zueinander entgegengesetzt sind, im rech- 
ten und im linken Bereich des Auslegers erzeugt Infolge 
des vorstehend Beschrieben en wird der Kopf 124 um 
eine auBerst kJeine Distanz in der Richtung eines Pfeiles 
in Fig. 27(b) ausgelenkt 

Es ist mdgiich, PZT fQr den piezoelektrischen Dunn- 
film 166 zu verwenden, obwohl in dieser Ausgestaltung 
ein Film aus ZnO verwendet wird. Durch den ZnO- Film 
gegebene Vorteile werden nachfolgend beschrieben. 

(1) Es ist moglich, einen stabilen Film fur die Aus- 
richtung mittels Sputtern zu schaffen. 

(2) Im Vergleich mit PZT ist es moglich, einen Film 
bei einer niedrigen Temperatur zu bilden. Im Falle 
von PZT ist die Film-Normalisierungstemperatur 
600° C, und im Falle von ZnO ist es nicht erforder- 
lich, den Film oberhalb 200° C zu normaiisieren; 

(3) deshalb ist es anders als im Falle von PZT nicht 
erforderlich, eine Polarisationsbehandlung auszu- 
fuhren; und 

(4) ein Film aus ZnO wurde fiir einen auf dem, 
Markt erhaUtiichen SAW- Filter verwendet und 
deshalb ist die Zuverlassigkeit hoch. 
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Nachteile des ZnO-Films sind nachfoigend beschrie- 
ben. 

(1) Die piezoelektrische Konstante von ZnO ist 
niedriger als die von PZT; und * 

(2) ZnO ist leicht in Saure oder Alkali Idsbar. Da der 
Dunnfilm aus ZnO leicht in Saure oder Alkali I6s- 
bar ist, wird der folgende Prozefl gewahlt Urn die 
Anfldsung des Dunnfilms aus ZnO im Falle des At- 
zens der Opferschicht 161 (Al) zu verhindern, wie in u 
Fig. 27(d) dargesteilt ist, wird es bevorzugt, den 
ZnO- Film 166 mit dem Elektrodenmaterial 165 und 
168 und mit dem Si0 2 167 abzudecken. 

Fig. 28 ist eine Ansicht, die eine andere Ausgestaltung 15 
des Antriebsabschnittes zeigt, bei welchem piezoelektri- 
sches Material verwendet wird. In dieser Ausgestaltung 
ist der piezoelektrische Dunnfilm 166 mit dem Film 169 
aus Si0 2 von der AuBenseite der Elektroden 165, 168 
abgedeckt Wenn auBerst kieine Poren auf dem piezo- 20 
elektrischen Dunnfilm 166 existieren, besteht eine Mog- 
lichkeit eines dielektrischen Zusammenbruchs zwischen 
der oberen bzw. der unteren Elektrode 165 bzw. 168. 
Deshalb ist es wie bei der in Fig. 27(a) gezeigten Ausge- 
staltung oder der hier diskutierten Ausgestaltung zu be- 25 
vorzugen, einen einen dielektrischen Zusammenbruch 
verhindernden Film 167 aus Si0 2i welcher dilnner als 
der piezoelektrische Film 166 ist, auf der oberen oder 
unteren Oberflache des piezoelektrischen Dunnfilms 
166 und innerhalb der Elektroden 165 und 168 vorzuse- 30 
hen. Je schmaler die Breite des durch den piezoelektri- 
schen Film 166 gebildeten Auslegers des Antriebsab- 
schnittes ist, umso mehr wird die Auslenkung erhoht 
Und wenn die Dicke des Dunnfilms 166 aus ZnO klein 
ist, dann wird die Intensitat des elektrischen Feldes be- 35 
zogen auf die zugefuhrte Spannung erhoht, so daB die 
Auslenkung erhoht wird. Vom Gesichtspunkt einer Ver- 
hutung eines dielektrischen Zusammenbruches sollte al- 
lerdings das Maximum der zugefQhrten Spannung ±50 
Vsein. 40 

Die Dimensionen wie beispielsweise Auslegerbreite 
und Filmdicke sind abhangig von der Resonanzfrequenz 
des Auslegers. Allgemein gilt, daB dann, wenn der Aus- 
leger schmai oder die Filmdicke klein gemacht werden, 
die Resonanzfrequenz niedrig ist Demzufolge sind die 45 
Dimensionen durch die zuvor erwahnte Auslenkung 
und die Resonanzfrequenz beschrankt 

Ais ein Verfahren zur Aufrechterhaltung der Steifig- 
keit des Auslegers in der Schweberichtung, wahrend die 
Auslenkung minimal gehalten werden soil, ist es mog- 50 
lien, einen prismenfdrmigen Trager in der Mitte der 
Auslegerbreite vorzusehen. So eine Ausgestaltung ist in 
Fig. 29 gezeigt Da der prismenformige Trager 170 nur 
in der Mitte der Auslegerbreite vorgesehen ist, ist die 
Bewegung in der Spurrichtung (der Richtung des Pfeiles 55 
X in* Fig. 29) relativ wenig blockiert, obwohl die Steifig- 
keit in der Schweberichtung (der Richtung des Pfeiles Z 
in Fig. 29) erheblich verbessert ist. 

In dem in den Fig. 27 bis 29 gezeigten Antriebsab- 
schnitt, bei welchem der piezoelektrische Film verwen- 60 
det wird, kann dann, wenn eine Spannung, deren Phasen 
zueinander entgegengesetzt sind, auf die geteilten bei- 
den oberen Elektroden 168a bzw. 168b aufgebracht 
wird, eine Bewegung durch Auslenkung des Kopfes 124 
in der Spurrichtung (X) um eine auBerst kieine Distanz 65 
ausgefQhrt werden. Wenn andererseits Spannungen, de- 
ren Phasen gleich sind, auf die geteilten oberen Elektro- 
den 168a und 168b aufgepragt werden, ist es auch mdg- 
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lich, den Kopf 124 in der Flugrichtung (Z) um eine au- 
Berst kieine Distanz zu verstellen. 

Fig. 30(a) und 30(b) sind Ansichten, die einen Kopf 
zeigen, welcher in der Spurrichtung (X) um eine auBerst 
kieine Distanz ausgelenkt worden ist Fig. 31(a) und 
31(b) sind Ansichten, welche das Betriebsprinzip zum 
Auslenken des Kopfes in der Flugrichtung (Z) zeigen. In 
dem in den Fig. 31(a) und 31(b) gezeigten Fail sind die 
Filmdicke der oberen Schicht 171 und die Filmdicke der 
unteren Schicht 172 unterschiedlich, wobei der ZnO- 
Dunnfilm 166 zwischen der oberen Schicht 171 und der 
unteren Schicht 172 angeordnet ist Deshalb fallt die 
neutrale Achse nicht mit der Mitte des piezoelektri- 
schen Films auf dem den piezoelektrischen Film enthal- 
tenden Abschnitt zusammen, vielmehr ist die neutrale 
Achse nach oben verschoben. Wenn der piezoelektri- 
sche Film bei dem oben beschriebenen Aufbau ausge- 
dehnt oder zusammengezogen wird, wird der Ausleger 
in der Richtung Z gebogen, so daB eine vorgegebene 
Auslenkung fur die Z-Richtung (der Lade- und Entlade- 
richtung) vorgesehen werden kann. Auch wenn die 
Filmdicke der oberen Schicht 171 und die Filmdicke der 
unteren Schicht 172 gleich sind, ist es dann, wenn der 
prismenformige Trager wie in Fig. 29 befestigt ist, mog- 
lich, den Effekt eines Verschiebens der neutralen Achse 
nach oben zu enreichen. Bei der tatsachlichen Antriebs- 
operation wird bevorzugt, sowohl die Spurkorrelctur als 
auch die Lade-/Entladefreiraum-Korrektur durchzufuh- 
ren. Es sei bemerkt, daB in den Fig. 30(a), 30(b), 3t(a) und 
31(b) die Auslenkung des Auslegers fur die Vereinfa- 
chung der Erlauterung erheblich Ubertrieben worden 
ist 

GemaB der vorliegenden Erfindung ist es moglich, 
den Aufbau des Kopfgleiters und den Herstellungspro- 
zeB zu vereinfachen. Ferner ist es moglich, das Kopfele- 
ment leicht in den Spurmechanismus oder den Lade- 
/Entlademechanismus zu inkorpurieren. Infolgedessen 
ist es mogiich, einen Dunnfilm-Magnetkopfgleiter hoher 
Leistung und geringer Kosten zu schaffen. Es ist auch 
mdgiich, die Informationsdichte eines Aufnahmeme- 
diums zu verbessern. 

Patentansprtlche 

1. Verfahren zum Hersteilen eines Dflnnfilm-Ma- 
gnetkopfgleiters mit einer Mediumgegenflache, 
welche dazu ausgelegt ist einem Auf nahmemedium 
gegenuber angeordnet zu sein, wobei das Verfah- 
ren die folgenden Schritte umfaflt: 
Anordnen eines Gleitermaterials auf einer Oberfla- 
che eines Substrates oder auf einer Oberflache ei- 
ner Opferschicht auf dem Substrat wobei die Ober- 
flache des Substrates oder die Oberflache der Op- 
ferschicht zuvor mit einer besonderen Form zum 
Ausbilden der Mediumgegenflache gebildet wird; 
Bilden des Gleiters auf dieser Oberflache des Sub- 
strates oder auf der Oberflache der Opferschicht; 
und 

Entfernen des Substrates oder der Opferschicht 
und des Substrates von dem Gleiter. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Schritte 
zum Formen des Gleiters die folgenden Schritte 
umfassen: 

Bilden einer Luftlagerschicht auf der Oberflache 
des Substrates oder auf der Oberflache der Opfer- 
schicht; und 

Bilden eines Gleiterkorpers und einer Vielzahi von' 
AnschlOssen jeweils aus einem elektrisch leitfahi- 
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gen Material auf der Luftlagerschicht 

3. Verfahren nach Anspruch 2, bei welchem die 
Vielzahl von Anschlussen in einem zentralen Be- 
reich des Gleiters angeordnet und der Gleiterkdr- 
per in einem peripheren Bereich urn die Vielzahl 5 
der Anschlusse herum angeordnet ist 

4. Verfahren nach Anspruch 2, bei welchem zwi- 
schen der Vielzahl von Anschlussen und zwischen 
diesen Anschlussen und dem Gleiterkdrper Spalte 
ausgebildet sind und diese Spalte mit einem holier- 10 
material gefilllt sind 

5. Verfahren nach Anspruch 2, bei welchem der 
Gleiterkdrper und die Vielzahl von Anschlussen 
gleichzeitig durch Plattieren gebildet werden. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem der 15 
Gleiter auf einer Kopfaufhangung montiert wird, 
die aus einer Blattfeder gemacht ist, und wobei 
dann das Substrat oder diese Opferschicht und das 
Substrat von dem Gleiter entfernt werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, bei welchem sowohl 20 
der Gleiterkdrper als auch die Vielzahl von An- 
schlussen auf die Kopfaufhangung geklebt werden, 
um den Gleiter an der Kopfaufhangung zu befesti- 
gen. 

8. Verfahren nach Anspruch 6, bei welchem die 25 
Kopfaufhangung erste und zweite einander abge- 
wandte Oberflachen hat, wobei der Gleiterkdrper 
auf die erste Oberflache der Kopfaufhangung ge- 
klebt wird, um den Gleiter an der Kopfaufhangung 
zu montieren, und wobei andererseits die Vielzahl 30 
von Anschlussen mit der zweiten, abgewandten 
Oberflache der Kopfaufhangung drahtverbunden 
ist. 

9. Verfahren nach Anspruch 2, bei welchem die 
Luftlagerflachenschicht aus einer Gruppe ausge- 35 
wahlt ist, die S1O2. AI2O3 und Kohlenstoff umfaflt, 
und bei welchem das leitfahige Material zum Bilden 
des Gleiterkorpers und der Vielzahl von Anschlus- 
sen aus einer Gruppe ge wahlt 1st, die Ni, NiFe, Au 
und Cu umfaflt. 40 

10. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem der 
Gleiter eine im wesendichen polygonale Form hat, 
wenn man ihn von der Seite der Mediumgegenfla- 
che her betrachtet, so daB ein Vorlaufende dieser 
polygonalen Form an den jeweiligen Seiten dersel- 45 
ben mit stumpfwinkligen Bereichen versehen ist 

11. Verfahren nach Anspruch 10, bei welchem der 
Gleiter eine Lange von etwa 0,8 mm oder unter 
0,8 mm entlang der Bewegungsrichtung des Auf- 
nahmemediums aufweist. 50 
1Z Verfahren zum Herstellen eines Diinnfilm-Ma- 
gnetkopfgleiters mit einer Mediumgegenflache, 
welche dazu ausgelegt ist, einem Aufnahmemedium 
gegenOberliegend angeordnet zu werden, wobei 
das Verfahren die folgenden Schritte umfaBt: 55 
Bilden einer Opferschicht auf einem Substrat in ei- 
ner solchen Weise, daB diese Opferschicht eine 
Oberflache hat, einschlieSlich Schritten zum Bilden 
der Mediumgegenflache so, daB wenigstens eine 
Schiene vorgesehen ist; eo 
Vorsehen eines Gleitermaterials auf der Oberfla- 
che der Opferschicht; und 

Entfernen der Opferschicht und des Substrates von 
dem Gleiter. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, bei welchem die 65 
wenigstens eine Schiene abgeschrdgte Abschnitte 
an einer Vorlaufseite des Gleiters hat, und bei wel- 
chem die Dicke der Opferschicht oder einer Unter- 
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schicht derselben nach und nach in bestimmten Be- 
reichen derselben vergrdBert wird, die den abge- 
schragten Abschnitten der Schienen entsprechen. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, bei welchem die 
Dicke der Opferschicht oder der Unterschicht der- 
selben nach und nach durch Trockenatzen dieser 
Opferschicht oder dieser Unterschicht unter Ver- 
wendung einer Maske vergrdBert wird, die aus ei- 
nem abgeschragten Fotoresistlack besteht 

15. Verfahren nach Anspruch 13, bei welchem die 
Dicke der Opferschicht oder der Unterschicht der- 
selben nach und nach durch Bildung eines abge- 
schragten Fotoresistlackes oder Polyimids und 
Harten desselben gebildet wird. 

16. Dtinnfilm-Magnetkopfgleiter, welcher dazu aus- 
gelegt ist, einem Aufnahmemedium gegenaberlie- 
gend angeordnet zu werden, umfassend: 

ein en auf einer Oberflache eines Substrates oder 
auf einer Oberflache einer auf einem Substrat vor- 
gesehenen Opferschicht vorgesehenen Gleiterkdr- 
per, wobei das Substrat oder die Opferschicht und 
das Substrat vom Gleiterkdrper getrennt sind; 
einen von einem stationaren Abschnitt des Gleiter- 
korpers gehaltenen Spurmechanismus derart, daB 
ein beweglicher Abschnitt, welcher ein Teil des 
Gleiterkorpers ist, in einer Spurrichtung annahernd 
senkrecht zu der Bewegungsrichtung des Aufnah- 
memediums bewegt werden kann; und 
wenigstens einen magnetischen Gegenpol eines 
Dunnfilrn-Magnetkopfelementes, welcher dazu 
ausgelegt ist, dem Aufnahmemedium gegenuberlie- 
gend angeordnet zu werden und welcher in einem 
beweglichen Abschnitt des Spurmechanismus vor- 
gesehen ist. 

17. Kopf gleiter nach Anspruch 16, bei welchem drei 
Druckerzeugungspads auf einer dem Aufnahme- 
medium gegenuberliegenden Oberflache des Gleit- 
erkorpers vorgesehen sind, und bei welchem der 
bewegiiche Abschnitt innerhalb eines Dreieckes 
angeordnet ist, welches aus den drei Druckerzeu- 
gungspads gebildet wird. 

18. Kopf gleiter nach Anspruch 16, bei welchem der 
bewegiiche Abschnitt vom stationaren Abschnitt 
uber wenigstens eine Haltefeder gehalten wird, wo- 
bei der Kopfgleiter ferner einen Antriebskrafter- 
zeugungsabschnitt zum Antreiben des beweglichen 
Abschnittes gegenuber dem stationaren Abschnitt 
gegen die elastische Kraft der Haltefeder durch 
eine elektrostatische Antriebskraf t umfaBt, die zwi- 
schen den einander gegenuberliegenden Oberfla- 
chen des beweglichen und des stationaren Ab- 
schnittes wirkt, wenn eine Spannung zwischen den 
einander gegenQberiiegenden Flachen angelegt 
wird. 

19. Kopfgleiter nach Anspruch 18, umfassend: 
einen stationaren Abschnitt mit einer Vielzahl von 
zueinander parallelen Zahnen; 

einen beweglichen Abschnitt mit einer Vielzahl von 
zu den Zahnen des stationaren Abschnittes paralle- 
len Zahnen; 

die Haltefeder zum Halten des beweglichen Ab- 
schnittes derart, daB der bewegiiche Abschnitt ge- 
genilber dem stationaren Abschnitt in Richtung der 
Zahnbreite bewegt werden kann; und 
den Antriebskrafterzeugungsabschnitt zum Bewe- 
gen des beweglichen Abschnittes in eine Position, 
bei der eine elektrostatische Anziehungskraft in 
Richtung der Zahnbreite, die erzeugt wird, wenn 
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eine Spannung zwischen den Zahnen des stationa- 
ren Abschnittes und denen des bewegiichen Ab- 
schnittes angelegt wind, durch die elastische Kraft 
der Haltefeder ausgeglichen wird. 

20. Kopfgleiter nach Anspruch 19, bei welchem die 5 
Vielzahl von Zahnen des stationaren Abschnittes 
und die des bewegiichen Abschnittes jeweils in 
gleichmaBigen Abstanden angeordnet sind, und bei 
welchem die Zahne des bewegiichen Abschnittes 
von den jeweiligen mitten zwischen den Zahnen 10 
des stationaren Abschnittes unter einer Bedingung, 
daB keine Spannung angelegt ist, abweichen. 

21. Kopfgleiter nach Anspruch 20 f bei welchem das 
Verhaltnis der Abstande von den Zahnen des be- 
wegiichen Abschnittes zu den benachbarten beiden 15 
Zahnen des stationaren Abschnittes jeweils anna- 
hernd 1,2 bis 10 ist 

22. Kopfgleiter nach Anspruch 19, 

bei welchem der stationare Abschnitt eine Vielzahl 
von zueinander paraUelen ersten Zahnen und eine 20 
Vielzahl von zu den ersten Zahnen parallelen zwei- 
ten Zahnen umfaBt, bei welchem die ersten und die 
zweiten Zahne gegeneinander isoliert sind; und 
bei welchem die Vielzahl der am bewegiichen Ab- 
schnitt vorgesehenen Zahne parallel zwischen den 25 
ersten und den zweiten Zahnen des stationaren Ab- 
schnittes angeordnet sind und Krafte abwechselnd 
in zueinander entgegengesetzten Richtungen er- 
zeugt werden, oder Krafte gleichzeitig in einander 
entgegengesetzten Richtungen und miteinander 30 
zusammenwirkend in Richtung der Zahnbreite er- 
zeugt werden, wenn eine Spannung zwischen dem 
bewegiichen Abschnitt und den ersten Zahnen des 
stationaren Abschnittes und auch zwischen dem 
bewegiichen Abschnitt und den zweiten Zahnen 35 
des stationaren Abschnittes angelegt wird. 

23. Kopfgleiter nach Anspruch 22, bei welchem der 
bewegliche Abschnitt elektrtsch geerdet ist. 

24. Kopfgleiter nach Anspruch 22, bei welchem eine 
Spannung wahlweise zwischen dem bewegiichen 40 
Abschnitt und den ersten Zahnen des stationaren 
Abschnittes und zwischen dem bewegiichen Ab- 
schnitt und den zweiten Zahnen des stationaren 
Abschnittes entsprechend der Richtung, in die der 
bewegliche Abschnitt bewegt werden soil, angelegt 45 
wird. 

25. Kopfgleiter nach Anspruch 22, bei welchem Off- 
setspannungen von 1/2 einer Maximalspannung 
zwischen dem bewegiichen Abschnitt und den er- 
sten Zahnen des stationaren Abschnittes bzw. zwi- 50 
schen dem bewegiichen Abschnitt und den zweiten 
Zahnen des stationaren Abschnittes angelegt wer- 
den und bei welchem Spannungen, deren Phasen 
zueinander entgegengesetzt sind, jeweils zwischen 
diesen addiert werden. 55 

26. Kopfgleiter nach Anspruch 1 9, bei welchem der 
stationare Abschnitt der bewegliche Abschnitt und 
die Haltefeder aus dem gleichen Metall hergestellt 
sind. 

27. Kopfgleiter nach Anspruch 26, bei welchem der 60 
stationare Abschnitt, der bewegliche Abschnitt und 
die Haltefeder durch Fallen des gleichen Metalls in 
ein Negativmuster gebildet werden. 

28. Kopfgleiter nach Anspruch 27, bei welchem das 
Negativmuster aus lichtempfindlichem Harz herge- 65 
stellt ist und bei welchem eine Metallplattierung in 
das aus lichtempfindlichem Harz gefertigte Nega- 
tivmuster hinein ausgefuhrt wird derart, daB der 
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stationare Abschnitt, der bewegliche Abschnitt und 
die Haltefeder gebildet werden. 

29. Kopfgleiter nach Anspruch 26, bei welchem der 
stationare Abschnitt der bewegliche Abschnitt und 
die Kopfaufhangung durch Atzen eines gleichma- 
Big ausgebildeten metallischen Films gebildet wer- 
den. 

30. Kopfgleiter nach Anspruch 19, bei welchem der 
bewegliche Abschnitt eine Vielzahl zueinander par- 
aileler erster Zahne und eine Vielzahl von zu den 
ersten Zahnen parallelen zweiten Zahnen aufweist, 
wobei die ersten und die zweiten Zahne gegenein- 
ander isoliert sind; und bei welchem der stationare 
Abschnitt eine Vielzahl von Zahnen aufweist, wo- 
bei die am stationaren Abschnitt vorgesehenen 
Zahne parallel zwischen den ersten und den zwei- 
ten Zahnen des bewegiichen Abschnittes angeord- 
net sind und Krafte abwechselnd in zueinander ent- 
gegengesetzten Richtungen erzeugt werden, oder 
Krafte gleichzeitig in entgegengesetzten Richtun- 
gen und miteinander zusammenwirkend in Rich- 
tung der Zahnbreite erzeugt werden, wenn eine 
Spannung zwischen dem stationaren Abschnitt und 
den ersten Zahnen des bewegiichen Abschnittes 
angelegt wird und auch wenn eine Spannung zwi- 
schen dem stationaren Abschnitt und den zweiten 
Zahnen des bewegiichen Abschnittes angelegt 
wird. 

31. Kopfgleiter nach Anspruch 18, bei welchem ein 
Leitungsdraht des Dunnfilm-Magnetkopfes ent- 
lang der Haltefeder vorgesehen ist 

32. Kopfgleiter nach Anspruch 18, bei welchem ein 
Leitungsdraht des Dunnfilm-Magnetkopfes von 
der Haltefeder nach auBen gezogen ist 

33. Kopfgleiter nach Anspruch 18, bei welchem ein 
Stopper zum Begrenzen der Bewegung des beweg- 
iichen Abschnittes vorgesehen ist und ein elektri- 
sches Potential des Stoppers das gleiche wie das 
des bewegiichen Abschnittes ist so daB ein elektri- 
scher KurzschluB zwischen dem bewegiichen und 
dem stationaren Abschnitt verhindert werden 
kann. 

34. Kopfgleiter nach Anspruch 18, bei welchem we- 
nigstens ein dem Aufnahmemedium gegenuberlie- 
gender Magnetpol des DQnnfilm-Magnetkopfele- 
ment es von einer dem Aufnahmemedium gegen- 
uberliegenden Flache des Gleiterfilms vorsteht 
oder alternativ dazu unter der Bedingung vorsteht, 
daB die Elektrode mit einer Schutzschicht Qber- 
deckt ist, und bei welchem andererseits der An- 
triebskrafterzeugungsabschnitt nicht von der dem 
Aufnahmemedium gegenuberliegenden Flache 
vorsteht 

35. Kopfgleiter nach Anspruch 16, bei welchem ein 
Antriebsmechanismus zum Antreiben des bewegii- 
chen Abschnittes gegenuber dem stationaren Ab- 
schnitt aus einem piezoelektrischen Element gebil- 
det ist 

36. Kopfgleiter nach Anspruch 35, bei welchem das 
piezoelektrische Element so zusammengesetzt ist, 
daB ein piezoelektrischer Film zwischen oberen 
und unteren Elektrodenschichten angeordnet ist 
die an beiden Seiten in einer Schweberichtung be- 
zOglich des Auf nahmemediums vorgesehen sind. 

37. Kopfgleiter nach Anspruch 36, bei welchem ein 
piezoelektrischer Film und ein Isolierfilm zwischen 
den oberen und den unteren Elektrodenschichten 
angeordnet sind. 
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38. Kopfgleiter nach Anspruch 36, bei welchem ent- 
weder die obere oder die untere Eiektrodenschicht 
in zwei Teile geteilt ist, iind bei welchem Spannun- 
gen, deren Phasen zueinander entgegengesetzt 
sind, an diese geteilten Elektroden angelegt wer- 5 
den. 

39. Kopfgleiter nach Anspruch 35, bei welchem das 
piezoelektrische Element aus ZnO oder PZT her- 
gestellt ist 

40. Kopfgleiter nach Anspruch 36, bei welchem der jo 
zwischen den oberen und den unteren Elektroden- 
schichten angeordnete piezoelektrische Film nicht 
symmetrisch bezuglich einer Aufwarts- und Ab- 
wartsrichtung ist 

41. Kopfgleiter nach Anspruch 36, bei welchem ein t5 
kissenformiger Trager auf einer Riickseke des pie- 
zoelektrischen Elementes angeordnet ist 

42; Kopfgleiter nach Anspruch 41, bei welchem der 
kissenformige Trager aus Metall, wie etwa Cu oder 
Ni, hergestellt ist 20 

43. Kopfgleiter nach Anspruch 35, bei welchem das 
gesamte piezoelektrische Element mit einem Iso- 
liermaterial uberdeckt ist 

44. Dunnfilm-Magnetkopfgleiter, welcher dazu aus- 
gelegt ist, einem Aufnahmemedium gegenuberlie- 25 
gend angeordnet zu werden, umfassend: 

einen Gleiterfilmkorper, welcher auf einer Oberfla- 
che eines Substrates oder auf einer Oberflache ei- 
ner auf einem Substrat angeordneten Opferschicht 
angeordnet ist, wobei das Substrat oder die Opfer- 30 
schicht und das Substrat von dem Gleiterkorper 
getrennt sind; 

ein Lade- und Entlademechanismus, welcher von 
einem stationaren Abschnitt des Gieiterfilmkor- 
pers so gehalten wird, daO ein beweglicher Ab- 35 
schnitt, welcher ein Teil des Gleiterkorpers ist, in 
einer Lade- und Entladerichtung bewegt werden 
kann, in welcher der bewegliche Abschnitt des 
Gleiterkorpers sich einem Aufnahmemedium na- 
hert oder sich von diesem entfernt; und 40 
wenigstens einen magnetischen Gegenpol eines 
DOnnfilm-Magnetkopfelementes, welcher dazu 
ausgelegt ist, dem Aufnahmemedium gegenUberlie- 
gend angeordnet zu werden und welcher in einem 
beweglichen Abschnitt des Lade- und Entlademe- 45 
chanismus vorgesehen ist 

45. Kopfgleiter nach Anspruch 44, bei welchem drei 
Druckerzeugungspads auf einer dem Aufnahme- 
medium gegenuberliegenden Oberflache des Gleit- 
erkorpers vorgesehen sind, und bei welchem der 50 
bewegliche Abschnitt innerhalb eines Dreieckes 
angeordnet ist welches aus den drei Druckerzeu- 
gungspads gebildet wird 

46. Kopfgleiter nach Anspruch 44, bei welchem der 
bewegliche Abschnitt vom stationaren Abschnitt 55 
flber wenigstens eine Haltefeder gehalten wird, wo- 
bei der Kopfgleiter ferner einen Antriebskrafter- 
zeugungsabschnitt zum Antreiben des beweglichen 
Abschnittes gegenuber dem stationaren Abschnitt 
gegen eine elastische Kraft der Haltefeder durch eo 
eine elektrostatische Anziehungskraft umfaBt die 
zwischen den einander gegenuberliegenden Ober- 
flachen des beweglichen und des stationaren Ab- 
schnittes wirkt, wenn eine Spannung zwischen den 
einander gegenuberliegenden Oberflachen ange- 65 
Iegt wird. 

47. Kopfgleiter nach Anspruch 46, umfassend: 
einen stationaren Abschnitt mit einer Vielzahl von 
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zueinander parallelen Zahnen; 
einen beweglichen Abschnitt mit einer Vielzahl von 
zu den Zahnen des stationaren Abschnittes paralle- 
len Zahnen; 

die Haltefeder zum Halten des beweglichen Ab- 
schnittes derart daft der bewegliche Abschnitt be- 
zuglich des stationaren Abschnittes in Richtung der 
Zahnbreite bewegt werden kann; und 
den Antriebskrafterzeugungsabschnitt zum Bewe- 
gen des beweglichen Abschnittes in eine Position, 
bei der eine elektrostatische Anziehungskraft in 
Richtung der Zahnbreite, die erzeugt wird, wenn 
eine Spannung zwischen den Zahnen des stationa- 
ren Abschnittes und denen des beweglichen Ab- 
schnittes angelegt wird, durch die elastische Kraft 
der Haltefeder ausgeglichen wird. 

48. Kopfgleiter nach Anspruch 47, bei welchem die 
Vielzahl von Zahnen des stationaren Abschnittes 
und die des beweglichen Abschnittes jeweils in 
gleichmaBigen Abstanden angeordnet sind, und bei 
welchem die Zahne des beweglichen Abschnittes 
von den jeweiligen Mitten zwischen den Zahnen 
des stationaren Abschnittes unter einer Bedingung, 
bei der keine Spannung aufgepragt wird, abwei- 
chen. 

49. Kopfgleiter nach Anspruch 48, bei welchem das 
Verhaltnis der Abstande von den Zahnen des be- 
weglichen Abschnittes zu den benachbarten beiden 
Zahnen des stationaren Abschnittes jeweils anna- 
hernd 1,2 bis 10 ist 

50. Kopfgleiter nach Anspruch 47, bei welchem der 
stationare Abschnitt eine Vielzahl von zueinander 
parallelen ersten Zahnen und eine Vielzahl von zu 
den ersten Zahnen parallelen zweiten Zahnen um- 
faBt, wobei die ersten und die zweiten Zahne ge- 
geneinander isoliert sind; und bei welchem die Viel- 
zahl von am beweglichen Abschnitt angeordneten 
Zahnen parallel zwischen den ersten und den zwei- 
ten Zahnen des stationaren Abschnittes angeord- 
net sind und Krafte abwechselnd in einander entge- 
gengesetzten Richtungen erzeugt werden, oder 
Krafte gieichzeitig in entgegengesetzten Richtun- 
gen und zusammenwirkend in der Zahnbreitenrich- 
tung erzeugt werden, wenn eine Spannung zwi- 
schen dem beweglichen Abschnitt und den ersten 
Zahnen des stationaren Abschnittes und auch zwi- 
schen dem beweglichen Abschnitt und den zweiten 
Zahnen des stationaren Abschnittes angelegt wird. 

51. Kopfgleiter nach Anspruch 50, bei welchem der 
bewegliche Abschnitt elektrisch geerdet ist 

5Z Kopfgleiter nach Anspruch 50, bei welchem eine 
Spannung wahlweise zwischen dem beweglichen 
Abschnitt und den ersten Zahnen des stationaren 
Abschnittes und auch zwischen dem beweglichen 
Abschnitt und den zweiten Zahnen des stationaren 
Abschnittes entsprechend einer Richtung, in der 
der bewegliche Abschnitt bewegt werden soil an- 
gelegt wird. 

53. Kopfgleiter nach Anspruch 50, bei welchem Off- 
setspannungen von 1/2 einer Maximalspannung 
zwischen dem beweglichen Abschnitt und den er- 
sten Zahnen des stationaren Abschnittes bzw. zwi- 
schen dem beweglichen Abschnitt und den zweiten 
Zahnen des stationaren Abschnittes angelegt wer- 
den, und bei welchem Spannungen, deren Phasen 
einander entgegengesetzt sind, jeweils zwischen 
diesen addiert werden. 

54. Kopfgleiter nach Anspruch 47, bei welchem der 
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stationare Abschnitt, der bewegliche Abschnitt und 
die Haitefeder aus dem gleichen Me tall hergestellt 
sind. 

55. Kopfgleiter nach Anspruch 54, bei welchem der 
stationare Abschnitt, der bewegliche Abschnitt und 5 
die Haitefeder durch Aufftillen des gleichen Metalls 

in ein negatives Formmuster gebildet werden. 

56. Kopfgleiter nach Anspruch 55, bei welchem das 
negative Muster aus lichtempfindlichem Harz her- 
gestellt ist, und bei welchem eine Metallplattierung 10 
in das aus negativem Harz gefertigte negative Mu- 
ster so ausgefuhrt wird, dafl der stationare Ab- 
schnitt, der bewegliche Abschnitt und die Haitefe- 
der gebildet werden. 

57. Kopfgleiter nach Anspruch 55, bei welchem der 15 
stationare Abschnitt, der bewegliche Abschnitt und 
die Kopfaufhangung durch Atzen eines gleichma- 
Big ausgebildeten Metallfilms gebildet sind. 

58. Kopfgleiter nach Anspruch 47, bei welchem der 
bewegliche Abschnitt umfaBt: 2 o 
eine Vielzahl von zueinander parallelen ersten Zah- 
nen und eine Vielzahl von zu den ersten Zahnen 
parallelen zweiten Zahnen, wobei die ersten und 
die zweiten Zahne gegeneinander isoliert sind; 
wobei der stationare Abschnitt eine Vielzahl von 25 
Zahnen umfaBt. bei welchem die an dem stationa- 
ren Abschnitt vorgesehenen Zahne parallel zwi- 
schen den ersten und den zweiten Zahnen des be- 
weglichen Abschnittes angeordnet sind, und wobei 
Krafte alternativ in einander entgegengesetzten 30 
Richtungen erzeugt oder Krafte gleichzeitig in ent- 
gegengesetzten Richtungen und zusammenwir- 
kend in der Zahnbreitenrichtung erzeugt werden, 
wenn eine Spannung zwischen dem stationaren 
Abschnitt und den ersten Zahnen des beweglichen 35 
Abschnittes angelegt und auch wenn eine Span- 
nung zwischen dem stationaren Abschnitt und den 
zweiten Zahnen des beweglichen Abschnittes an- 
gelegt wird. 

59. Gleiter nach Anspruch 46, bei welchem ein Lei- 40 
tungsdraht fur den Dunnfilm-Magnetkopf entlang 
der Haitefeder vorgesehen ist 

60. Kopfgleiter nach Anspruch 46, bei welchem ein 
Leitungsdraht des Dunnfilm-Magnetkopfes von 
der Haitefeder nach auBen gezogen ist 45 

61. Kopfgleiter nach Anspruch 46, bei welchem ein 
Stopper zum Begrenzen der Bewegung des beweg- 
lichen Abschnittes vorgesehen ist, und das elektri- 
sche Potential des Stoppers das gleiche wie das des 
beweglichen Abschnittes ist, so daB ein elektrischer 50 
KurzschiuB zwischen dem beweglichen und dem 
stationaren Abschnitt verhindert werden kann. 

62. Kopfgleiter nach Anspruch 46, bei welchem we- 
nigstens ein dem Aufnahmemedium gegeniiberlie- 
gender Magnetpol des Dunnfilm-Magnetkopfele- 55 
mentes von einer dem Aufnahmemedium gegen- 
Oberliegenden Oberflache des Gleiterfilms vorsteht 
oder alternativ dazu unter einer Bedingung vor- 
steht, daB der Magnetpol mit einer Schutzschicht 
Qberdeckt ist, und wobei andererseits der Antriebs- 60 
krafterzeugungsabschnitt nicht von der dem Auf- 
nahmemedium gegenuberliegenden Oberflache 
vorsteht 

63. Kopfgleiter nach Anspruch 44, bei welchem ein 
Antriebsmechanismus zum Antreiben des bewegli- 65 
chen Abschnittes gegenuber dem stationaren Ab- 
schnitt aus einem piezoelektrischen Element gebil- 
det ist 
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64. Kopfgleiter nach Anspruch 63, bei welchem das 
piezoelektrische Element in einer solchen Weise 
aufgebaut ist, daB ein piezoelektrischer Film zwi- 
schen oberen und unteren Elektrodenschichten an- 
geordnet ist, die an beiden Seiten in einer Schwebe- 
richtung bezuglich des Aufnahmemediums vorge- 
sehen sind 

65. Kopfgleiter nach Anspruch 64, bei welchem ein 
piezoelektrischer Film und ein Isolierfilm zwischen 
den oberen und den unteren Elektrodenschichten 
angeordnet sind. 

66. Kopfgleiter nach Anspruch 64, bei welchem ent- 
weder die obere oder die untere Elektrodenschicht 
in zwei Teile geteilt ist, und Spannungen, deren 
Phasen einander entgegengesetzt sind, an diese ge- 
teilten Elektroden angelegt werden. 

67. Kopfgleiter nach Anspruch 63. bei welchem das 
piezoelektrische Element aus ZnO oder PZT her- 
gestellt ist 

68. Kopfgleiter nach Anspruch 64, bei welchem der 
zwischen den oberen und den unteren Elektroden- 
schichten angeordnete piezoelektrische Film nicht 
symmetrisch bezuglich einer A uf warts- und Ab- 
wartsrichtung ist 

69. Kopfgleiter nach Anspruch 64, bei welchem ein 
kissenformiger Trager an der Ruckseite des piezo- 
elektrischen Elementes angeordnet ist 

70. Kopfgleiter nach Anspruch 69, bei welchem der 
kissenfOrmige Trager aus Metall, wie etwa Cu oder 
Ni, hergestellt ist 

71. Kopfgleiter nach Anspruch 63, bei welchem das 
gesamte piezoelektrische Element mit einem Iso- 
liermaterial abgedeckt ist 

72. Dunnfilm-Magnetkopf gleiter, welcher dazu aus- 
gelegt ist, einem Aufnahmemedium gegenuberlie- 
gend angeordnet zu werden, umfassend: 

einen auf einer Oberflache eines Substrates oder 
auf einer Oberflache einer auf einem Substrat an- 
geordneten Opferschicht angeordneten Gleiter- 
korper, wobei das Substrat oder die Opferschicht 
und das Substrat von dem Gleiterkorper getrennt 
sind; 

wobei der Gleiterkorper einen stationaren Ab- 
schnitt und einen von diesem stationaren Abschnitt 
uber wenigstens eine Haitefeder in einer solchen 
Weise gehaltenen beweglichen Abschnitt aufweist, 
daB der bewegliche Abschnitt sowohl in einer 
Spurrichtung annahernd senkrecht zu einer Bewe- 
gungsrichtung des Aufnahmemediums sowie in ei- 
ner Lade- und Entladerichtung bewegt werden 
kann, bei welcher der bewegliche Abschnitt des 
Gleiterkorpers sich einem Aufnahmemedium na- 
hert bzw. sich von diesem entfernt und wenigstens 
einen an dem beweglichen Abschnitt eines Spurme- 
chanismus vorgesehenen magnetischen Gegenpol 
eines Dunnfilm-Magnetkopf elementes, welcher da- 
zu ausgelegt ist, dem Aufnahmemedium gegen- 
uberliegend angeordnet zu werden. 

73. Kopfgleiter nach Anspruch 72, bei welchem der 
stationare Abschnitt eine Vielzahl von zueinander 
parallelen Zahnen hat, bei welchem der bewegliche 
Abschnitt eine Vielzahl von zu den Zahnen des sta- 
tionaren Abschnittes parallelen Zahnen hat bei 
welchem die Haitefeder den beweglichen Ab- 
schnitt so halt, daB der bewegliche Abschnitt ge- 
geniiber dem stationaren Abschnitt bewegt werden 
kann, bei welchem die Haitefeder auch den beweg- 
lichen Abschnitt so halt daB der bewegliche Ab- 
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schnitt in einer zweiten Richtung annahemd senk- 
recht zu einer Aufnahmemediumflache bewegt 
werden kann, wobei ein Antriebskrafterzeugungs- 
abschnitt zum Bewegen des beweglichen Abschnit- 
tes in eine Position vorgesehen ist, bei der eine 5 
elektrostatische Entziehungskraft in Richtung der 
Zahnbreite, die erzeugt wird, wean eine Spannung 
zwischen den Zahnen des stationaren Abschnittes 
und denen des beweglichen Abschnittes angelegt 
wird, durch die elastische Kraft der Haltefeder aus- 10 
geglichen wird, und bei welchem iro stationaren 
Abschnitt wenigstens an einer Seite des bewegli- 
chen Abschnittes in der zweiten Richtung eine 
Elektrode vorgesehen ist, und bei welchem dann, 
wenn eine Spannung zwischen der Elektrode und 15 
dem beweglichen Abschnitt angelegt wird, der be- 
wegliche Abschnitt in der zweiten Richtung urn ei- 
ne auBerst kleine Distanz durch die Verwendung 
einer elektrostatischen Anziehungskraft bewegt 
wird. 20 

74. Kopfgleiter nach Anspruch 72, bei welchem das 
an dem beweglichen Abschnitt vorgesehene Kopf- 
element so vorsteht, daB es einer Oberflache des 
Aufnahmemediums gegenuberliegt und wobei ein 
Stellantrieb einen von dem Kopfelement abwei- 25 
chenden Teil des beweglichen Abschnittes umfaBt, 
und bei welchem der stationare Abschnitt und die 
Haltefeder durch ein Abdeckelement des Gleiter- 
korpers so abgedeckt ist, daB der Stellantrieb daran 
gehindert wird, zur Oberflache des Aufnahmeme- 30 
diums hin uberzustehen. 

75. Elektrostatischer Stellantrieb, umfassend: 
einen stationaren Abschnitt mit einer Vielzahl von 
zueinander parallel en Zahnen; 

einen beweglichen Abschnitt mit einer Vielzahl von 35 
zu den Zahnen des stationaren Abschnittes paralle- 
len Zahnen; 

eine Haltefeder zum Halten des beweglichen Ab- 
schnittes derart, daB der bewegliche Abschnitt ge- 
gentlber dem stationaren Abschnitt in Zahnbreiten- 40 
richtung verstellt werden kann; und 
einen Antriebskrafterzeugungsabschnitt zum Be- 
wegen des beweglichen Abschnittes in eine Posi- 
tion, bei der eine elektrostatische Anziehungskraft 
in der Zahnbreitenrichtung, die erzeugt wird, wenn 45 
eine Spannung zwischen den Zahnen des stationa- 
ren Abschnittes und denen des beweglichen Ab- 
schnittes angelegt wird, durch eine elastische Kraft 
der Haltefeder ausgeglichen wird. 

76. Elektrostatischer Stellantrieb nach Anspruch 50 

75, bei welchem die Vielzahl von Zahnen des statio- 
naren Abschnittes und die des beweglichen Ab- 
schnittes jeweils in gleichmaBigen Abstanden ange- 
ordnet sind, und bei welchem die Zahne des beweg- 
lichen Abschnittes von den jeweiligen Mitten zwi- 55 
schen den Zahnen des stationaren Abschnittes un- 
ter einer Bedingung, daB eine Spannung nicht ange- 
legt ist, abweichen. 

77. Elektrostatischer Stellantrieb nach Anspruch 

76, bei welchem das Verhaltnis der Abstande von 60 
den Zahnen des beweglichen Abschnittes zu den 
benachbarten beiden Zahnen des stationaren Ab- 
schnittes jeweils annahemd 1^2 bis 10 ist 

78. Elektrostatischer Stellantrieb nach Anspruch 
75, bei welchem der stationare Abschnitt eine Viel- 55 
zahl von ersten, zueinander paraJlelen Z&hnen und 
eine Vielzahl von zweiten, zu den ersten Zahnen 
parallelen Zahnen umfaBt, wobei die ersten und die 
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zweiten Zahne gegeneinander isoliert sind; und bei 
welchem die Vielzahl von am beweglichen Ab- 
schnitt vorgesehenen Zahnen parallel zwischen den 
ersten und den zweiten Zahnen des stationaren Ab- 
schnittes angeordnet sind und Krafte abwechselnd 
in zueinander entgegengesetzten Richtungen er- 
zeugt oder Krafte gleichzeitig in entgegengesetz- 
ten Richtungen und zusammenwirkend in der 
Zahnbreitenrichtung erzeugt werden, wenn eine 
Spannung zwischen dem beweglichen Abschnitt 
und den ersten Zahnen des stationaren Abschnittes 
sowie auch zwischen dem beweglichen Abschnitt 
und den zweiten Zahnen des stationaren Abschnit- 
tes angelegt wird. 

79. Elektrostatischer Stellantrieb nach Anspruch 
78, bei welchem der bewegliche Abschnitt elek- 
trisch geerdet ist. 

80. Elektrostatischer Stellantrieb nach Anspruch 
78, bei welchem eine Spannung wahhveise zwi- 
schen dem beweglichen Abschnitt und den ersten 
Zahnen des stationaren Abschnittes sowie auch 
zwischen dem beweglichen Abschnitt und den 
zweiten Zahnen des stationaren Abschnittes ent- 
sprechend einer Richtung, in welcher der bewegli- 
che Abschnitt bewegt werden soil, angelegt wird 

81. Elektrostatischer Stellantrieb nach Anspruch 
78, bei welchem eine Offsetspannung von 1/2 einer 
Maximalspannung zwischen dem beweglichen Ab- 
schnitt und den ersten Zahnen des stationaren Ab- 
schnittes bzw. zwischen dem beweglichen Ab- 
schnitt und den zweiten Zahnen des stationaren 
Abschnittes angelegt wird, und bei welchem Span- 
nungen, deren Phasen der Offsetspannung entge- 
gengesetzt sind, auch jeweils zwischen diesen ange- 
legt werden. 

82. Elektrostatischer Stellantrieb nach Anspruch 
75, bei welchem der stationare Abschnitt, der be- 
wegliche Abschnitt und die Haltefeder aus dem 
gieichen Metall hergestellt sind. 

83. Elektrostatischer Stellantrieb nach Anspruch 
82, bei welchem der stationare Abschnitt, der be- 
wegliche Abschnitt und die Haltefeder durch Fal- 
len des gieichen Metails in ein negatives Formmu- 
ster gebildet sind 

84. Elektrostatische Stellantrieb nach Anspruch 83, 
bei welchem das negative Muster aus lichtempfind- 
lichem Harz hergestellt ist, und wobei eine Metall- 
plattierung in das aus lichtempfindlichem Harz her- 
gestellte negative Muster hinein ausgefuhrt wird, 
so daB der stationare Abschnitt, der bewegliche 
Abschnitt und die Haltefeder gebildet werden. 

85. Elektrostatischer Stellantrieb nach Anspruch 
82, bei welchem der stationare Abschnitt, der be- 
wegliche Abschnitt und die Haltefeder durch Atzen 
eines gleichmaBig ausgebildeten metallischen Films 
gebildet werden. 

86. Elektrostatischer Stellantrieb nach Anspruch 
75, bei welchem der bewegliche Abschnitt eine 
Vielzahl von ersten, zueinander parallelen Zahnen 
und eine Vielzahl von zweiten, zu den ersten Zah- 
nen parallelen Zahnen aufweist, wobei die ersten 
und die zweiten Zahne gegeneinander isoliert sind; 
und bei welchem der stationare Abschnitt eine 
Vielzahl von Zahnen umfaBt, wobei die am statio- 
naren Abschnitt vorgesehenen Zahne parallel zwi- 
schen den ersten und den zweiten Zahnen des be- 
weglichen Abschnittes angeordnet sind und Krafte 
abwechselnd in einander entgegengesetzten Rich- 
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tungen erzeugt oder Krafte gleichzeitig in entge- 
gengesetzten Richtungen und zusammenwirkend 
in der Zahnbrehenrichtung erzeugt werden, wenn 
eine Spannung zwischen dem stationaren Ab- 
schnitt und den ersten Zahnen des beweglichen Ab- 5 
schnittes und auch eine Spannung zwischen dem 
stationaren Abschnitt und den zweiten Zahnen des 
beweglichen Abschnittes angelegt wird. 

87. Elektrostatischer Stellantrieb nach Anspruch 
75, bei welchem ein Leitungsdraht fUr den DOnn- to 
film-Magnetkopf entlang der Haltefeder vorgese- 
hen 1st 

88. Elektrostatischer Stellantrieb nach Anspruch 
75, bei welchem ein Leitungsdraht des Dunnfilm- 
Magnetkopfes sich von der Haltefeder aus er- 15 
streckt 

89. Elektrostatischer Stellantrieb nach Anspruch 
75, bei welchem ein Stopper zum Begrenzen der 
Bewegung des beweglichen Abschnittes vorgese- 
hen ist und das elektrische Potential des Stoppers 20 
das gleiche wie das des beweglichen Abschnittes ist, 

so daB ein elektrischer KurzschluB zwischen dem 
beweglichen und dem stationaren Abschnitt ver- 
hindert werden kann. 

90. Elektrostatischer Stellantrieb nach Anspruch 25 
75, bei welchem die Haltefeder auch den bewegli- 
chen Abschnitt halt, so daB der bewegliche Ab- 
schnitt auch in einer zweiten Richtung annahernd 
senkrecht zur ersten Zahnbrehenrichtung gegen- 
uber dem stationaren Abschnitt bewegt werden 30 
kann, und bei welchem eine Elektrode im stationa- 
ren Abschnitt wenigstens an einer Seite des beweg- 
lichen Abschnittes in der zweiten Richtung ange- 
ordnet ist und der bewegliche Abschnitt in der 
zweiten Richtung urn eine auBerst kleine Distanz 35 
unter Einsatz einer elektrostatischen Anziehungs- 
kraft verstellt wird. 
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